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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の内視鏡のスコープコネクタに簡便に接続
チューブを取り付けることができる内視鏡リプロセッサ
を提供する。
【解決手段】内視鏡リプロセッサは、トップカバー及び
装置本体を有して構成される。トップカバーが開かれる
と、処理槽２１は、外部に露出する。処理槽２１には、
底部２１ａと、底部２１ａを一段低く形成した底部凹部
２２と、底部２１ａから立ち上がる処理槽壁２３と、処
理槽上縁２４と、送気送水用コネクタ３１、３２、３３
、３４、３５、３６、３７、３８と、保持網４１と、洗
浄ケース５１と、水位計６１、６２と、薬液ノズル６３
と、循環ノズル７１と、を有して構成される。底部凹部
２２は、送気送水用コネクタ３０と、保持網４１との間
に配置される。底部凹部２２には、第１及び第２の操作
部配置部２２ａ、２２ｂと、第１及び第２のスコープコ
ネクタ配置部２２ｃ、２２ｄが設けられる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　第１のスコープコネクタ配置部と、
　前記第１のスコープコネクタ配置部と隣り合うように配置され、前記第１のスコープコ
ネクタ配置部よりも一段高い、第２のスコープコネクタ配置部と、
　を有することを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、内視鏡リプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、汚染された内視鏡に対し、洗浄消毒等の再生処理をする内視鏡リプロセッサがあ
る。内視鏡リプロセッサでは、複数の内視鏡を再生処理することができるように、複数の
内視鏡を接続チューブによって内視鏡リプロセッサに接続し、処理槽に配置可能である。
例えば、特開２０１５－７０９４７号公報では、２つの内視鏡を接続し、洗浄消毒するこ
とができる洗浄消毒装置が開示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－７０９４７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の洗浄消毒装置は、２つの内視鏡が処理槽に配置されるとき、各内視鏡の
スコープコネクタは、処理槽内に、互いに重なるように配置されてしまうことがあり、各
スコープコネクタに対する接続チューブの取付けが煩雑になる問題がある。
【０００５】
　そこで、本考案は、複数の内視鏡のスコープコネクタに簡便に接続チューブを取り付け
ることができる内視鏡リプロセッサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案の一態様の内視鏡リプロセッサは、第１のスコープコネクタ配置部と、前記第１
のスコープコネクタ配置部と隣り合うように配置され、前記第１のスコープコネクタ配置
部よりも一段高い、第２のスコープコネクタ配置部と、を有する。
【考案の効果】
【０００７】
　本考案によれば、複数の内視鏡のスコープコネクタに簡便に接続チューブを取り付ける
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの外観構成を説明するための説
明図である。
【図２】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽の構成を説明するため
の説明図である。
【図３】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽に内視鏡の挿入部を配
置した状態を説明するための説明図である。
【図４】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽に内視鏡を配置した状
態を説明するための説明図である。
【図５】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタの配置を示す模式図
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である。
【図６】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽の処理槽壁の構成を示
す模式図である。
【図７】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのトップカバーのパッキンの構
成を説明するための説明図である。
【図８】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのパッキンの断面形状を示す断
面図である。
【図９】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのパッキンの断面形状を示す断
面図である。
【図１０】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの保持網及び付属品ケースの
構成を説明するための説明図である。
【図１１】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽の水位計の構成を説
明するための説明図である。
【図１２】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液ノズルの構成を説明す
るための説明図である。
【図１３】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液ノズル内の薬液受け止
め部の構成を説明するための正面図である。
【図１４】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液ノズル内の薬液受け止
め部の構成を説明するための側面図である。
【図１５】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液ノズル内の薬液受け止
め部の構成を説明するための底部拡大図である。
【図１６】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液ノズルの薬液導出口の
構成を説明するための切断部端面図である。
【図１７】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのトップカバーの構成を説明
するための上面図である。
【図１８】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのトップカバーの構成を説明
するための１８－１８線組合せ断面図である。
【図１９】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの断面形状を示
す断面図である。
【図２０】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの加温部の構成を説明するた
めの説明図である。
【図２１】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの加温部取付口
及びフランジの構成を説明するための斜視図である。
【図２２】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの加温部取付口
及びフランジの構成を説明するための上面図である。
【図２３】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの加温部の構成
を説明するための説明図である。
【図２４】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの水位センサの
入力信号の波形を説明するための波形図である。
【図２５】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの水位センサの
入力信号の波形を説明するための波形図である。
【図２６】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの薬液タンクの水位センサの
入力信号の波形を説明するための波形図である。
【図２７】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ洗剤ボトル及び洗剤ボトルト
レイの構成を説明するための説明図である。
【図２８】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのスタイラスペンの構成を説
明するための説明図である。
【図２９】本考案の実施形態に係わる内視鏡リプロセッサの内部の配管構成の一例を示す
図である。
【図３０】本考案の実施形態に係わる、漏水検知用コネクタに接続される自動漏水検知装
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置に連通する管路と排水用管路の管路の構造を示す図である。
【図３１】本考案の実施形態に係わる、漏水検知用コネクタに接続される自動漏水検知装
置に連通する管路と、排水用管路の他の構造の例を示す図である。
【図３２】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの配管構成を概略的に示すブ
ロック図である。
【図３３】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサに設けられる自動漏水検知装
置の構成を示す構成図である。
【図３４】本考案の実施形態に係わる、制御部により実行される自動漏水検知装置の動作
を示すフローチャートである。
【図３５】本考案の実施形態に係わる、圧力センサの圧力変化の例を示すグラフである。
【図３６】本考案の実施形態に係わる、自動漏水検知装置の自己診断の処理の流れを示す
フローチャートである。
【図３７】本考案の実施形態に係わる、薬液の循環を説明するための図である。
【図３８】本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの超音波出力に関わる構成を
説明するための図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら、本考案の実施形態を説明する。
【００１０】
　（外観構成）
　図１は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の外観構成を説明するため
の説明図である。図２は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の処理槽２
１の構成を説明するための説明図である。図３は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リ
プロセッサ１の処理槽２１に内視鏡Ｅの挿入部を配置した状態を説明するための説明図で
ある。図４は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の処理槽２１に内視鏡
Ｅを配置した状態を説明するための説明図である。
【００１１】
　内視鏡リプロセッサ１は、汚染された内視鏡Ｅ、及び、内視鏡Ｅの部品又は付属品等の
再生処理を行う装置である。ここでいう再生処理とは、特に限定されるものではなく、水
によるすすぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を無効化する消毒、全ての微
生物を排除、もしくは、死滅させる滅菌、又は、これらの組み合わせのいずれであっても
よい。付属品は、特に限定されず、例えば、使用時に内視鏡Ｅに装着されて再生処理時に
内視鏡Ｅから取り外される吸引ボタン、送気送水ボタン、または内視鏡Ｅの先端部を覆う
先端カバーなどが挙げられる。
【００１２】
　内視鏡リプロセッサ１は、トップカバー１１及び装置本体１１１を有して構成される。
トップカバー１１は、装置本体１１１に開閉自在に取り付けられる。装置本体１１１は、
バーコードリーダ２と、スタイラスホルダ３と、スタイラスペン４と、表示パネルにタッ
チパネルが重畳配置された操作パネル２１１と、を有する。
【００１３】
　トップカバー１１が開かれると、処理槽２１は、外部に露出する。図２に示すように、
処理槽２１には、底部２１ａと、底部２１ａを一段低く形成した底部凹部２２と、底部２
１ａから立ち上がる処理槽壁２３と、処理槽上縁２４と、送気送水用コネクタ３１、３２
、３３、３４、３５、３６、３７、３８と、保持網４１と、洗浄ケース５１と、水位計６
１、６２と、薬液ノズル６３と、循環ノズル７１と、を有して構成される。図２では、送
気送水用コネクタ３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８は、８つ表されるが
、全ての送気送水用コネクタ又はいずれか１つの送気送水用コネクタを表すときには、送
気送水用コネクタ３０という。なお、図２では、送気送水用コネクタ３０は、８つ表され
るが、８つに限定されるものではない。
【００１４】
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　底部凹部２２は、送気送水用コネクタ３０と、保持網４１との間に配置される。底部凹
部２２には、第１及び第２の操作部配置部２２ａ、２２ｂと、第１及び第２のスコープコ
ネクタ配置部２２ｃ、２２ｄが設けられる。
【００１５】
　操作部Ｅａが第１の操作部配置部２２ａに配置され（図３）、挿入部が保持網４１に巻
き回して保持され、スコープコネクタＥｂが第１のスコープコネクタ配置部２２ｃに配置
され、内視鏡Ｅは、処理槽２１にセットされる（図４）。
【００１６】
　図示はしないが、同様に他の内視鏡も、操作部が第２の操作部配置部２２ｂに配置され
、挿入部が保持網４１に巻き回して保持され、スコープコネクタが第２のスコープコネク
タ配置部２２ｄに配置され、処理槽２１にセットされる。
【００１７】
　（第１及び第２のスコープコネクタ配置部２２ｃ、２２ｄの構成）
　第１及び第２のスコープコネクタ配置部２２ｃ、２２ｄの具体的構成について、説明を
する。
【００１８】
　第１のスコープコネクタ配置部２２ｃは、スコープコネクタＥｂを配置できるように構
成される。第１のスコープコネクタ配置部２２ｃは、底部凹部２２において、第１の操作
部配置部２２ａ及び第２のスコープコネクタ配置部２２ｄと隣り合うように配置される。
第１のスコープコネクタ配置部２２ｃは、第１の操作部配置部２２ａ及び第２のスコープ
コネクタ配置部２２ｄよりも一段低くなるように形成される。
【００１９】
　第２のスコープコネクタ配置部２２ｄは、他の内視鏡のスコープコネクタを配置できる
ように構成される。第２のスコープコネクタ配置部２２ｄは、底部凹部２２において、第
１の操作部配置部２２ａ及び第１のスコープコネクタ配置部２２ｃと隣り合うように配置
される。第２のスコープコネクタ配置部２２ｄは、第１の操作部配置部２２ａ及び第１の
スコープコネクタ配置部２２ｃよりも一段高くなるように形成される。
【００２０】
　これにより、第１のスコープコネクタ配置部２２ｃにスコープコネクタＥｂが配置され
、第２のスコープコネクタ配置部２２ｄに他のスコープコネクタが配置され、第１及び第
２のスコープコネクタ配置部２２ｃ、２２ｄの間には、段差が形成される。したがって、
２つのスコープコネクタの各々は、互いに横方向に並んで配置され、簡便に接続チューブ
Ｔを取り付けることができる。
【００２１】
　（第１及び第２の操作部配置部２２ａ、２２ｂの構成）
　従来、内視鏡リプロセッサでは、内視鏡の操作部の配置位置が保持網によって示される
。
【００２２】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、底部凹部２２に、第１及び第２の操作部配置部２
２ａ、２２ｂを設けることで、操作部の配置位置を分かり易くしている。
【００２３】
　第１及び第２の操作部配置部２２ａ、２２ｂの構成について説明をする。
【００２４】
　第１の操作部配置部２２ａは、操作部Ｅａを配置できるように構成される。第１の操作
部配置部２２ａは、底部凹部２２において、第２の操作部配置部２２ｂ、第１のスコープ
コネクタ配置部２２ｃ及び第２のスコープコネクタ配置部２２ｄと隣り合うように配置さ
れる。第１の操作部配置部２２ａは、第２の操作部配置部２２ｂ及び第２のスコープコネ
クタ配置部２２ｄよりも一段低くなるように形成され、第１のスコープコネクタ配置部２
２ｃよりも一段高くなるように形成される。第１の操作部配置部２２ａは、操作部Ｅａ及
び操作部Ｅａから延出するユニバーサルコードの折れ止め部が配置できるように、第２の
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操作部配置部２２ｂ方向へ小円状に膨出するように形成される。
【００２５】
　第２の操作部配置部２２ｂは、他の内視鏡の操作部を配置できるように構成される。第
２の操作部配置部２２ｂは、底部凹部２２において、第１の操作部配置部２２ａと隣り合
うように配置される。第２の操作部配置部２２ｂは、第１の操作部配置部２２ａよりも一
段高くなるように形成される。第２の操作部配置部２２ｂは、操作部Ｅａ及び操作部Ｅａ
から延出するユニバーサルコード基端の折れ止め部が配置できるように、保持網４１の外
周へ向けて漸次高くなる断面Ｕ字状凹部を有する。
【００２６】
　これにより、第１及び第２の操作部配置部２２ａ、２２ｂの各々は、底部凹部２２にお
いて、操作部Ｅａの外形状に沿って形成され、術者にとって操作部の配置位置が分かりや
すい。
【００２７】
　（送気送水用コネクタ３０の配置の構成）
　内視鏡Ｅは、操作部Ｅａに接続された２本の接続チューブＴと、スコープコネクタＥｂ
に接続された２本の接続チューブＴと、によって内視鏡リプロセッサ１と接続される。処
理槽２１には、２つの内視鏡Ｅ１、Ｅ２をセットすることができる。したがって、処理槽
２１では、８本の接続チューブＴによって２つの内視鏡Ｅ１、Ｅ２が内視鏡リプロセッサ
１に接続される。
【００２８】
　しかしながら、処理槽２１では、内視鏡Ｅ１、Ｅ２と内視鏡リプロセッサ１とを接続す
る接続チューブＴの数が多く、内視鏡Ｅ１、Ｅ２と内視鏡リプロセッサ１との接続が煩雑
である。
【００２９】
　そこで、処理槽２１では、内視鏡Ｅ１、Ｅ２の配置に合わせ、送気送水用コネクタ３０
が配置されるようにしている。
【００３０】
　内視鏡リプロセッサ１の送気送水用コネクタ３０の配置について、説明をする。
【００３１】
　図５は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の送気送水用コネクタ３０
の配置を示す模式図である。
【００３２】
　第１の操作部配置部２２ａと、第２の操作部配置部２２ｂと、第１のスコープコネクタ
配置部２２ｃと、第２のスコープコネクタ配置部２２ｄと、の各々は、送気送水用コネク
タ３０と隣り合うように、底部凹部２２に配置される。
【００３３】
　送気送水用コネクタ３１、３２は、第２の操作部配置部２２ｂと隣り合うように配置さ
れる。送気送水用コネクタ３３、３４は、第１の操作部配置部２２ａと隣り合うように配
置される。送気送水用コネクタ３５、３６は、第２のスコープコネクタ配置部２２ｄと隣
り合うように配置される。送気送水用コネクタ３７、３８は、第１のスコープコネクタ配
置部２２ｃと隣り合うように配置される。
【００３４】
　接続チューブＴは、送気送水／吸引シリンダに接続される接続チューブＴ１と、鉗子口
に接続される接続チューブＴ２と、吸引口金に接続される接続チューブＴ３と、前方送水
口金に接続される接続チューブＴ４とを有して構成される。接続チューブＴ１、Ｔ２、Ｔ
３、Ｔ４は、筒状に形成される装置本体側取付部を有する。接続チューブＴ１、Ｔ２、Ｔ
３、Ｔ４の装置本体側取付部の各々の内周部は、誤取付けされないように、送気送水用コ
ネクタ３０の各々の外周部の形状に応じて形成される。
【００３５】
　送気送水用コネクタ３１、３４には、接続チューブＴ１が接続される。送気送水用コネ
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クタ３２、３３には、接続チューブＴ２が接続される。送気送水用コネクタ３５、３８に
は、接続チューブＴ３が接続される。送気送水用コネクタ３６、３７には、接続チューブ
Ｔ４が接続される。送気送水用コネクタ３０の各々は、全体が凸状に形成される。送気送
水用コネクタ３０の外周部は、誤取付けされないように、接続チューブＴの装置本体側取
付部の各々の内周部の形状に応じて形成される。
【００３６】
　第２の操作部配置部２２ｂに配置される内視鏡Ｅ２の操作部Ｅ２ａは、接続チューブＴ
１を介して送気送水用コネクタ３１に接続され、接続チューブＴ２を介して送気送水用コ
ネクタ３２に接続される。第１の操作部配置部２２ａに配置される内視鏡Ｅ１の操作部Ｅ
１ａは、接続チューブＴ１を介して送気送水用コネクタ３４に接続され、接続チューブＴ
２を介して送気送水用コネクタ３３に接続される。第２のスコープコネクタ配置部２２ｄ
に配置される内視鏡Ｅ２のスコープコネクタＥ２ｂは、接続チューブＴ３を介して送気送
水用コネクタ３５に接続され、接続チューブＴ４を介して送気送水用コネクタ３６に接続
される。第１のスコープコネクタ配置部２２ｃに配置される内視鏡Ｅ１のスコープコネク
タＥ１ｂは、接続チューブＴ３を介して送気送水用コネクタ３８に接続され、接続チュー
ブＴ４を介して送気送水用コネクタ３７に接続される。
【００３７】
　これにより、送気送水用コネクタ３０は、第１の操作部配置部２２ａと、第２の操作部
配置部２２ｂと、第２のスコープコネクタ配置部２２ｃと、第２のスコープコネクタ配置
部２２ｄと、の各々に隣り合うように配置され、また、接続チューブＴの種類に応じて異
なるように形成される。したがって、内視鏡Ｅ１、Ｅ２と内視鏡リプロセッサ１との接続
が簡便である。
【００３８】
　（内視鏡側コネクタＴｃの構成）
　接続チューブＴの内視鏡側コネクタＴｃは、内視鏡Ｅの鉗子口に取り付けられる。
【００３９】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡側コネクタＴｃの外周に、斜めに突出する
ように形成されたチューブ取付筒Ｔｄを配置するようにしている。
【００４０】
　内視鏡側コネクタＴｃの構成について、説明をする。
【００４１】
　接続チューブＴの内視鏡側コネクタＴｃは、円筒状に形成される。内視鏡側コネクタＴ
ｃは、一端に内視鏡Ｅに取り付けるための内視鏡取付口を有し、他端に手指で押し込むた
めの平坦部を有する。
【００４２】
　内視鏡側コネクタＴｃは、外周に、斜めに突出するように形成されたチューブ取付筒Ｔ
ｄを有する。チューブ取付筒Ｔｄは、チューブ本体を外嵌めできるように、外周に滑り止
め突起を有し、内側に流体流路を有する。チューブ取付筒Ｔｄは、内視鏡側コネクタＴｃ
の軸方向に対して傾斜するように形成される。より具体的には、内視鏡側コネクタＴｃの
内視鏡取付口が内視鏡Ｅの鉗子口に取り付けられると、チューブ取付筒Ｔｄに取り付けら
れたチューブ本体が操作部Ｅａの軸方向に沿った方向に配置されるように、チューブ取付
筒Ｔｄは、操作部Ｅａの軸方向に対して傾斜するように形成される。
【００４３】
　これにより、チューブ取付筒Ｔｄに取り付けられたチューブ本体が操作部Ｅａに沿って
配置され、チューブ本体は、隣に配置される他の内視鏡のスコープコネクタにかからず、
他の内視鏡のスコープコネクタの配置作業の邪魔にならない。
【００４４】
　（処理槽２１の処理槽壁２３の構成）
　内視鏡リプロセッサ１は、トップカバー１１を閉じることによって処理槽２１が水密状
態になるように、トップカバー１１裏面の周縁を周回するようにパッキン１２（図７）が
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取り付けられる。また、処理槽２１には、処理槽２１を周回するように処理槽壁２３にパ
ッキン受け２５が形成される。
【００４５】
　しかしながら、内視鏡リプロセッサ１では、再生処理の終了後にトップカバー１１を開
けた際、パッキン受け２５に処理槽２１の液体が残ると、液体を拭き取る手間がかかる。
【００４６】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、パッキン受け２５に液体が残らないようにしてい
る。
【００４７】
　処理槽２１の処理槽壁２３について、説明をする。
【００４８】
　図６は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の処理槽２１の処理槽壁２
３の構成を示す模式図である。
【００４９】
　処理槽２１の処理槽壁２３は、テーパ状に形成されたパッキン受け２５を有して構成さ
れる。図６に示すように、処理槽２１では、底部２１ａからパッキン受け２５下端にかけ
て処理槽壁２３が立ち上がるように形成され、続いてパッキン受け２５がテーパ状に形成
され、続いてパッキン受け２５上端から処理槽上縁２４にかけてさらに処理槽壁２３が立
ち上がるように形成される。パッキン受け２５は、処理槽２１を周回するように処理槽壁
２３内に形成される。
【００５０】
　これにより、トップカバー１１を開けるとパッキン受け２５に残った液体は、テーパ状
のパッキン受け２５から流れ落ち、パッキン受け２５の拭き取りの手間はかからない。
【００５１】
　（トップカバー１１のパッキン１２の構成１）
　トップカバー１１裏面には、トップカバー１１周縁を周回するようにパッキン１２が取
り付けられる。パッキン１２は、環状に形成され、軸方向の端部に処理槽２１のパッキン
受け２５に当てるためのリップ１２ａを有する（図８及び図９）。
【００５２】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、パッキン１２のリップ１２ａ先端が内周方向へ向
いてパッキン受け２５に当たるようにしている。
【００５３】
　図７は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１のトップカバー１１のパッ
キン１２の構成を説明するための説明図である。図８及び図９は、本考案の実施形態に係
わる、内視鏡リプロセッサ１のパッキン１２の断面形状を示す断面図である。
【００５４】
　パッキン１２の構成について、説明をする。
【００５５】
　図７に示すように、トップカバー１１裏面の周縁には、環状に形成されたパッキン１２
が取り付けられる。
【００５６】
　パッキン１２は、軸方向の端部に、処理槽２１のパッキン受け２５に当てるためのリッ
プ１２ａを有する。図８及び図９に示すように、トップカバー１１が閉じられると、リッ
プ１２ａは、パッキン受け２５に当たり、リップ１２ａ先端が内周方向Ｉへ向いてパッキ
ン受け２５に沿って湾曲する。
【００５７】
　これにより、処理槽２１の内圧に対して捲れにくく、リップ１２ａとパッキン受け２５
の間に処理槽２１の液体が入りにくく、液体が湾曲したリップ１２ａの内側に溜まらない
。
【００５８】
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　（トップカバー１１のパッキン１２の構成２）
　パッキン１２は、トップカバー１１裏面に設けられた取付溝に、密着性を高めることが
できるように、伸ばされて取り付けられる。
【００５９】
　しかしながら、パッキン１２は、曲りのきつい部位では大きく伸ばされ、その結果、リ
ップ１２ａ先端が内側に倒れ、水密性を悪化させることがある。
【００６０】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、パッキン１２のリップ１２ａ基端に肉厚部１２ｂ
を形成するようにしている。
【００６１】
　図９に示すように、パッキン１２は、リップ１２ａ基端の外周側を肉厚に形成した肉厚
部１２ｂを有して構成される。肉厚部１２ｂは、曲りのきつい部位に配置されることが好
ましい。
【００６２】
　これにより、パッキン１２は、曲りのきつい部位における伸びが抑えられ、リップ１２
ａ先端の内周方向Ｉへの倒れ込みが抑えられ、水密性の悪化を抑える。
【００６３】
　（トップカバー１１及びパッキン１２の構成）
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡リプロセッサ１の巨大化を抑え、処理槽２
１とパッキン１２のシール圧が高くならないようにしている。
【００６４】
　図６、図８及び図９に示すように、処理槽２１側のシール面であるパッキン受け２５は
、テーパ状に形成される。
【００６５】
　図８及び図９に示すように、パッキン１２のリップ１２ａは、パッキン受け２５との接
触面積が大きくなるように、パッキン１２底部からパッキン１２の外周方向へ延出し、続
いて内周方向Ｉへ曲がるように形成される。
【００６６】
　これにより、パッキン受け２５の横幅が小さく、リップ１２ａとパッキン受け２５との
接触面積が大きくなるように構成され、内視鏡リプロセッサ１の巨大化を抑え、かつシー
ル圧が水密性を保ちつつ劣化が加速しない程度の圧にすることができる。
【００６７】
　（洗浄ケース５１の構成１）
　洗浄ケース５１は、内視鏡Ｅから取り外した付属品や部品（以下単に「付属品」という
）を収納し、内視鏡Ｅとともに付属品を洗浄可能である。
【００６８】
　付属品にチェーンＣ１を介してタグＣ２が取り付けられているとき、タグＣ２は、チェ
ーンＣ１を介して洗浄ケース５１の外側に配置される。
【００６９】
　しかしながら、タグＣ２が取り付けられている付属品が複数あり、各付属品に取り付け
られるタグＣ２がそれぞれチェーンＣ１を介して洗浄ケース５１の外側に配置されると、
各付属品に接続されるチェーンＣ１が互いに絡み合い、洗浄ケース５１内に収納された各
付属品が十分に撹拌されなくなることがある。
【００７０】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、各付属品に接続されるチェーンＣ１が互いに絡み
合わないようにしている。
【００７１】
　図１０は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の保持網４１及び洗浄ケ
ース５１の構成を説明するための説明図である。
【００７２】
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　洗浄ケース５１の構成について説明をする。
【００７３】
　洗浄ケース５１は、ケース本体及び蓋を有して構成される。ケース本体及び蓋は、鎖に
よって連結される。洗浄ケース５１は、ケース本体底部にノズル取付部を有し、内視鏡リ
プロセッサ１の処理槽２１に設けられたノズルに取り付けられる。
【００７４】
　ケース本体は、有底筒状に形成され、内側に付属品を収納可能である。ケース本体は、
上部に開口を有し、開口の周囲に外向フランジを有する。外向フランジ上には、外向フラ
ンジの内縁から外縁に貫通する貫通溝５１ａが複数設けられる。
【００７５】
　蓋は、ケース本体上部に、着脱自在に取り付けられる。
【００７６】
　これにより、洗浄ケース５１内の複数の付属品からタグＣ２を取り出す際、複数の付属
品に取り付けられているチェーンＣ１の各々を、複数の貫通溝５１ａの各々に配置可能で
ある。したがって、複数のチェーンＣ１が互いに絡み合うことを防ぐことができる。
【００７７】
　（洗浄ケース５１の構成２）
　洗浄ケース５１では、チェーンＣ１を介して付属品にタグＣ２が取り付けられていると
き、洗浄ケース５１の外側にタグＣ２を配置できる。
【００７８】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、洗浄ケース５１の外側に配置されるタグＣ２の配
置位置が定まるようにしている。
【００７９】
　ケース本体は、外周に位置決め部５１ｂが取り付けられる。位置決め部５１ｂは、凸状
に形成される。
【００８０】
　ケース本体を保持する保持網４１には、洗浄ケース５１の位置決め部５１ｂを内挿でき
るように、凹状に形成された洗浄ケース取付部４２を有する。
【００８１】
　これにより、位置決め部５１ｂが洗浄ケース取付部４２に内挿され、洗浄ケース５１は
、所定の向きで洗浄ケース取付部４２に取り付けられる。貫通溝５１ａにチェーンＣ１を
配置してタグＣ２が洗浄ケース５１の外部に配置されることにより、タグＣ２の配置位置
が所定領域内に定められる。
【００８２】
　（フロートの固着状態の検出１）
　内視鏡リプロセッサ１は、水位計６１、６２によって処理槽２１内の液体の水位を検知
する。
【００８３】
　図１１は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の処理槽２１の水位計６
１、６２の構成を説明するための説明図である。
【００８４】
　水位計６１、６２の構成について、説明をする。
【００８５】
　水位計６１、６２の各々は、フロートセンサを有して構成される。
【００８６】
　水位計６１は、底部凹部２２の第２の操作部配置部２２ｂ内に設けられる。水位計６１
は、円筒容器６１ａと、ステム６１ｂと、ストッパ６１ｃ１、６１ｃ２と、フロート６１
ｄ１、６１ｄ２とを有して構成される。
【００８７】
　円筒容器６１ａは、図示しない開口を有し、処理槽２１の液体を内部に取り込むことが
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できるように構成される。円筒容器６１ａ内には、軸方向に沿ってステム６１ｂが立設さ
れる。ステム６１ｂには、後述する水位計６２よりも低い位置にストッパ６１ｃ１、６１
ｃ２が取り付けられ、水位計６２のストッパ６２ｃよりも高い位置にストッパ６１ｃ２が
取り付けられる。フロート６１ｄ１は、軸方向中央に取付孔を有し、ストッパ６１ｃ１の
下方において、取付孔によってステム６１ｂにスライド自在に取り付けられる。フロート
６１ｄ２は、軸方向中央に取付孔を有し、ストッパ６１ｃ１とストッパ６１ｃ２の間にお
いて、取付孔によってステム６１ｂにスライド自在に取り付けられる。フロート６１ｄ１
、６１ｄ２は、円筒容器６１ａ内に取り込まれる処理槽２１の液体の液面の高さに応じて
ステム６１ｂの軸方向へ移動可能である。フロート６１ｄ１は、ステム６１ｂ下端からス
トッパ６１ｃ１まで移動可能であり、フロート６１ｄ２は、ストッパ６１ｃ１からストッ
パ６１ｃ２まで移動可能である。
【００８８】
　ステム６１ｂ内には、軸方向に複数のリードスイッチが設けられる。ステム６１ｂ内の
複数のリードスイッチは、制御部１６３に接続される。フロート６１ｄ１、６１ｄ２の各
々の内部には、リードスイッチをＯＮ／ＯＦＦするための磁石が設けられる。処理槽２１
の液面の高さに応じてフロート６１ｄ１、６１ｄ２が動くと、フロート６１ｄ１、６１ｄ
２と近接したリードスイッチがフロート６１ｄ１、６１ｄ２内の磁石の磁力によってＯＮ
状態になり、一方、フロート６１ｄ１、６１ｄ２から離間したリードスイッチがＯＦＦ状
態になり、水位計６１は、処理槽２１の水位を検出する。水位計６１は、フロート６１ｄ
１、６１ｄ２によって検出された水位を検出信号として制御部１６３に出力する。
【００８９】
　水位計６２は、第２の操作部配置部２２ｂよりも一段高いテラス部内に設けられる。水
位計６２は、円筒容器６２ａと、ステム６２ｂと、ストッパ６２ｃと、フロート６２ｄと
を有して構成される。
【００９０】
　円筒容器６２ａ内には、軸方向に沿ってステム６２ｂが立設される。ステム６２ｂの上
部には、ストッパ６１ｃ２よりも低い位置にストッパ６２ｃが設けられる。フロート６２
ｄは、軸方向中央に取付孔を有し、ストッパ６２ｃの下方において、取付孔によってステ
ム６２ｂにスライド自在に取り付けられる。フロート６２ｄは、円筒容器６２ａ内に取り
込まれる処理槽２１の液体の液面の高さに応じ、ステム６２ｂ下端からストッパ６２ｃま
で移動可能である。
【００９１】
　ステム６２ｂ内には、フロート６２ｄ内の磁石によってＯＮ／ＯＦＦされる複数のリー
ドスイッチが設けられる。処理槽２１の液面の高さに応じてフロート６２ｄが動くと、複
数のリードスイッチのＯＮ／ＯＦＦ状態が切り替わり、水位計６２は、処理槽２１の水位
を検出する。水位計６２は、フロート６２ｄによって検出された水位を検出信号として制
御部１６３に出力する。
【００９２】
　制御部１６３は、水位計６１、６２から入力される検出信号により、フロート６１ｄ１
、６１ｄ２、６２ｄの各々が、例えばステム６１ｂ、６２ｂ等の他の部材に固着され、水
位に応じて移動できない固着状態になっているか否かを、判定することができる。制御部
１６３は、フロート６１ｄ１、６１ｄ２、６２ｄのいずれかが固着状態になっていると判
定するとき、操作パネル２１１に警告メッセージを表示させる。
【００９３】
　次に、制御部１６３における固着状態の判定処理について、説明をする。
【００９４】
　フロート６１ｄ１が水位を検出しない、かつフロート６２ｄが水位を検出するとき、制
御部１６３は、フロート６１ｄ１が固着状態であると判定する。フロート６１ｄ１は、フ
ロート６２ｄが配置されるテラス部よりも低い位置にある。通常であれば、水位の上昇に
応じ、フロート６２ｄよりもフロート６１ｄ１が先に上昇を開始する。したがって、フロ
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ート６１ｄ１が水位を検出しないにも関わらずフロート６２ｄが水位を検出するとき、フ
ロート６１ｄ１は、固着状態であると判定される。
【００９５】
　フロート６１ｄ２が水位を検出しない、かつフロート６２ｄが水位を検出するとき、制
御部１６３は、フロート６１ｄ２が固着状態であると判定する。ストッパ６１ｃ１は、水
位計６２よりも低い位置にある。通常であれば、水位の上昇に応じ、フロート６２ｄより
もストッパ６１ｃ１に載っているフロート６１ｄ２が先に上昇を開始する。したがって、
フロート６１ｄ２が水位を検出しないにも関わらずフロート６２ｄが水位を検出するとき
、フロート６１ｄ２は、固着状態であると判定される。
【００９６】
　フロート６２ｄが水位を検出しない、かつフロート６１ｄ２が所定水位よりも高い水位
であることを検出するとき、制御部１６３は、フロート６２ｄが固着状態であると判定す
る。所定水位は、フロート６２ｄが検出可能である最低水位よりも高い水位に予め設定さ
れる。したがって、フロート６２ｄが水位を検出しないにも関わらずフロート６１ｄ２が
所定水位よりも高い水位であることを検出するとき、フロート６２ｄは、固着状態である
と判定される。
【００９７】
　これにより、フロート６１ｄ１、６１ｄ２、６２ｄのいずれかが固着状態にあるとき、
内視鏡リプロセッサ１は、操作パネル２１１に警告メッセージを表示し、術者にフロート
６１ｄ１、６１ｄ２、６２ｄの固着状態を解消させ、処理槽２１に貯留された液体の水位
を検出することができる。
【００９８】
　（フロートの固着状態の検出２）
　フロート６１ｄ２、６２ｄのいずれか一方が固着状態になったとき、制御部１６３は、
フロート６１ｄ２、６２ｄのいずれか一方が固着状態であることを判定することができる
。
【００９９】
　しかしながら、フロート６１ｄ２、６２ｄの両方が固着状態になると、内視鏡リプロセ
ッサ１は、フロート６１ｄ２、６２ｄを超える液体の水位を検出できなくなるという課題
がある。
【０１００】
　また、処理槽２１から液体が溢れるまでの時間は、例えば、処理槽２１の大きさや単位
時間当たりの給水量等の給水条件に応じて異なる。
【０１０１】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、フロート６１ｄ２、６２ｄの両方が固着状態にな
っていることを検出できるようにしている。
【０１０２】
　制御部１６３は、例えば、給水電磁弁１２５等、処理槽２１に液体を供給する管路に設
けられた電磁弁の開放開始時間を検出し、給水開始からフロート６１ｄ１が水位を検出す
るまでの時間を計測できるように構成される。
【０１０３】
　制御部１６３は、給水開始からフロート６１ｄ１が水位を検出するまでの時間に基づい
て、フロート６１ｄ２、６２ｄが水位を検出するまでの時間を算出する。制御部１６３は
、算出した時間から、所定時間を経過しても、フロート６１ｄ２、６２ｄが水位を検出し
ないとき、操作パネル２１１に警告メッセージを表示させ、給水を停止させる。
【０１０４】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１は、フロート６１ｄ２、６２ｄの両方が固着状態に
なっている場合においても、フロート６１ｄ２、６２ｄの固着状態を検出し、処理槽２１
から液体が溢れないように、操作パネル２１１に警告メッセージを表示し、給水を停止す
ることができる。
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【０１０５】
　（薬液受け止め部６３ｅ内の薬液の濃度低下の抑制）
　薬液ノズル６３は、薬液の濃度検査のため、上部に設けられたキャップ６３ｂを開け、
内部に貯留される薬液に、テストストリップ先端を浸漬させ、また、ピペット先端を挿入
させることができる。薬液ノズル６３の内部には、テストストリップが落下しないように
、薬液受け止め部６３ｅが取り付けられる。
【０１０６】
　図１２は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液ノズル６３の構成
を説明するための説明図である。図１３は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセ
ッサ１の薬液ノズル６３内の薬液受け止め部６３ｅの構成を説明するための正面図である
。図１４は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液ノズル６３内の薬
液受け止め部６３ｅの構成を説明するための側面図である。図１５は、本考案の実施形態
に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液ノズル６３内の薬液受け止め部６３ｅの構成を説
明するための底部拡大図である。
【０１０７】
　薬液ノズル６３の構成について、説明をする。
【０１０８】
　薬液ノズル６３は、薬液タンク８１に連通し、薬液タンク８１内の薬液を処理槽２１に
導出できるように構成される。薬液ノズル６３は、処理槽２１内のテラス部に配置される
。薬液ノズル６３は、胴部６３ａと、キャップ６３ｂと、逆止弁６３ｃと、薬液導出口６
３ｄと、薬液受け止め部６３ｅと、を有して構成される。
【０１０９】
　胴部６３ａは、筒状に形成され、内部に薬液を貯留可能である。
【０１１０】
　キャップ６３ｂは、胴部６３ａの上部に着脱自在に取り付けられる。
【０１１１】
　逆止弁６３ｃは、胴部６３ａの下部に設けられ、胴部６３ａ内に貯留された薬液が薬液
タンク８１に戻らないように、逆止する。
【０１１２】
　薬液導出口６３ｄは、胴部６３ａの外周に突出するように筒状に形成される。薬液導出
口６３ｄでは、基端が胴部６３ａの内部と連通し、先端が開口する。
【０１１３】
　薬液受け止め部６３ｅは、胴部６３ａの上部に着脱自在に取り付けられる。図１３及び
図１４に示すように、薬液受け止め部６３ｅは、胴部６３ａの内径よりも一回り小さい、
略有底筒状に形成される。筒壁には、複数の矩形孔６３ｆが形成される。上部は、胴部６
３ａ上縁に当たるように、複数段の鍔状に形成される。図１５に示すように、薬液受け止
め部６３ｅ底部には、貫通孔６３ｇが形成される。貫通孔６３ｇの下方には、貫通孔６３
ｇに挿入されたピペットを当止めできるように、貫通孔６３ｇを挟んで互いに対向した２
つの部位を基端として貫通孔６３ｇに臨むようにストッパ６３ｈが形成される。
【０１１４】
　これにより、薬液受け止め部６３ｅの筒壁には、複数の矩形孔６３ｆが形成され、底部
２１ａには、貫通孔６３ｇが形成され、薬液ノズル６３内の水位が薬液受け止め部６３ｅ
下端よりも下がると、薬液は薬液受け止め部６３ｅから流れ落ち、逆止弁６３ｃが壊れて
いた場合であっても薬液受け止め部６３ｅ内に少量の薬液が残留してしまうことを防止で
きる。
【０１１５】
　（薬液ノズル６３の薬液流出の防止）
　薬液ノズル６３では、薬液の導出が停止されると、表面張力が作用し、薬液導出口６３
ｄの内周側には、薬液が溜まる。
【０１１６】
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　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、キャップ６３ｂを取り外した際に、薬液導出口６
３ｄから表面張力により溜まっていた薬液が流出することを防止できるようにしている。
【０１１７】
　図１６は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液ノズル６３の薬液
導出口６３ｄの構成を説明するための切断部端面図である。
【０１１８】
　薬液導出口６３ｄの構成について、説明をする。
【０１１９】
　薬液導出口６３ｄの先端には、内径を一段大きくした大径部６３ｉが設けられる。
【０１２０】
　これにより、薬液導出口６３ｄの先端面では、薬液と空気の接触面積が大きくなり、薬
液の溜まりを抑え、キャップ６３ｂを取り外した際における薬液導出口６３ｄからの薬液
の流出を防止することができる。
【０１２１】
　（トップカバー１１のドーム１１ａ内側の洗浄１）
　トップカバー１１は、処理槽２１内の気体を図示しないガスフィルタに排出できるよう
に、ガスフィルタ取付口１３の周囲をトップカバー１１表面に向かって膨出するように形
成したドーム１１ａを有する。内視鏡リプロセッサ１は、再生処理をするとき、トップカ
バー１１裏面のドーム１１ａ内側も洗浄消毒できるように、吐出しノズル７１ａ及び第２
ノズル１３４からドーム１１ａ内側に向けて洗浄消毒液を噴出する。
【０１２２】
　しかしながら、内視鏡リプロセッサ１では、ガスフィルタ取付口１３の下端が、ドーム
１１ａ内側に突出するように形成され、吐出しノズル７１ａ及び第２ノズル１３４に対し
てガスフィルタ取付口１３の背後の部位Ｈを隠してしまうという課題がある。
【０１２３】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、ドーム１１ａ内側のガスフィルタ取付口１３の背
後の隠された部位Ｈに対しても洗浄消毒液を噴出できるようにしている。
【０１２４】
　図１７は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１のトップカバー１１の構
成を説明するための上面図である。図１８は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロ
セッサ１のトップカバー１１の構成を説明するための１８－１８線組合せ断面図である。
【０１２５】
　図１７及び図１８に示すように、トップカバー１１を閉じた状態において、ドーム１１
ａの下方には、循環ノズル７１上部の吐出しノズル７１ａと、第２ノズル１３４と、が配
置される。
【０１２６】
　ドーム１１ａは、ガスフィルタ取付口１３を有する。ガスフィルタ取付口１３は、短筒
状に形成され、ドーム１１ａ内側に下端が突出するように形成される。
【０１２７】
　ドーム１１ａ内側には、リブ１４、１５が設けられる。
【０１２８】
　リブ１４、１５は、吐出しノズル７１ａ及び第２ノズル１３４から噴出された流体を、
ガスフィルタ取付口１３の背後の隠された部位Ｈに導くことができるように構成される。
【０１２９】
　リブ１４、１５は、ガスフィルタ取付口１３の外周から所定距離離れた位置であって、
吐出しノズル７１ａ及び第２ノズルと、部位Ｈとに、臨むように配置される。
【０１３０】
　リブ１４、１５は、ドーム１１ａ内側に凸状になるように形成され、ガスフィルタ取付
口１３側が凹状になるように湾曲した細長状に形成される。リブ１４、１５は、短手方向
に所定間隔を空けて２本形成される。
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【０１３１】
　吐出しノズル７１ａ及び第２ノズル１３４が流体を噴出すると、噴出された流体は、リ
ブ１４、１５に沿ってガスフィルタ取付口１３の周囲を周回し、ガスフィルタ取付口１３
の背後の隠された部位Ｈに導かれる（図１７のＲ）。
【０１３２】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１では、吐出しノズル７１ａ及び第２ノズル１３４は
、ガスフィルタ取付口１３の背後の隠された部位Ｈに、洗浄消毒液を噴出することができ
る。
【０１３３】
　（トップカバー１１のドーム１１ａ内側の洗浄２）
　内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡Ｅを再生処理する際、ドーム１１ａ内側を含むトッ
プカバー１１の裏側全体に、薬液を噴出し洗浄消毒を行う。
【０１３４】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、少ない流量の流体によって、トップカバー１１裏
面全体を洗浄消毒できるようにしている。
【０１３５】
　第２ノズル１３４は、内視鏡Ｅに流体を供給する管路から分岐され、吐出しノズル７１
ａと隣り合うように処理槽２１内に配置される。したがって、第２ノズル１３４及び吐出
しノズル７１ａは、互いに異なるポンプによって流体を噴出させる。
【０１３６】
　制御部１６３は、吐出しノズル７１ａから流体を噴出する前、かつ内視鏡Ｅ内に流体を
導出する前に、第２ノズル１３４から流体を噴出させ、トップカバー１１裏面のうち吐出
しノズル７１ａから吹きかけ難い部位の濡れ性が良好な状態になるようにする。制御部１
６３は、第２ノズル１３４から流体を噴出した後、吐出しノズル７１ａから流体を噴出さ
せ、接続チューブＴを介して内視鏡Ｅ内に流体を導出させる。第２ノズル１３４により予
め吐出しノズル７１ａから吹きかけ難い部位の濡れ性を高めることで、吐出しノズル７１
ａから噴出された流体が前記吹きかけ難い部位にまで回り込む。
【０１３７】
　これにより、トップカバー１１裏面全体の濡れ性が良好な状態となった後、吐出しノズ
ル７１ａから流体が噴出され、少ない流量の流体によって、トップカバー１１裏面全体を
洗浄消毒可能である。
【０１３８】
　（加温部８３の空焚き防止）
　内視鏡リプロセッサ１は、装置本体１１１内に薬液タンク８１を有する。内視鏡リプロ
セッサ１では、例えば、朝の業務開始直後等、即座に最適な温度の薬液を使用することが
できるように、夜間のうちに加温部８３によって薬液を加温する。
【０１３９】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、薬液の水位が発熱部８３ｂよりも低いとき、加温
部８３の動作を停止させるようにしている。
【０１４０】
　図１９は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液タンク８１の断面
形状を示す断面図である。
【０１４１】
　薬液タンク８１の構成について、説明をする。
【０１４２】
　薬液タンク８１は、薬液を貯留できるように構成される。薬液タンク８１は、薬液ポン
プによって処理槽２１に薬液を導出できるように、薬液導出管路を介して薬液ノズル６３
に連通される。薬液タンク８１は、処理槽２１の薬液を回収できるように、薬液回収管路
１５５を介して処理槽２１に連通される。薬液タンク８１は、開閉自在なドレン部８２を
有し、ドレン部８２を介して薬液タンク８１内の薬液を排出可能である。薬液タンク８１



(16) JP 3205321 U 2016.7.21

10

20

30

40

50

は、加温部８３と、水位センサ８４と、を有して構成される。加温部８３及び水位センサ
８４は、制御部１６３に接続される。
【０１４３】
　加温部８３は、薬液タンク８１を加温できるように構成される。加温部８３は、支持部
８３ａと、発熱部８３ｂとを有して構成される。支持部８３ａは、薬液タンク８１上部に
設けられた加温部取付口８１ａに挿入され、発熱部８３ｂを支持する。発熱部８３ｂは、
支持部８３ａ先端から水平方向に延出される。発熱部８３ｂは、制御部１６３の制御の下
、電流を流され、ジュール熱によって薬液タンク８１内の薬液を加温できるように構成さ
れる。
【０１４４】
　水位センサ８４は、薬液タンク８１内の薬液の水位を検出できるように構成される。水
位センサ８４は、制御部１６３に接続される。水位センサ８４は、例えば、２本の電極棒
を有する電極式センサによって構成される。水位センサ８４では、第１電極の先端が薬液
タンク８１の底部近傍に配置され、第２電極の先端が発熱部８３ｂよりも上方の所定水位
の位置に配置される。薬液タンク８１の水位が第２電極の先端よりも低くなると、第１電
極と第２電極の間が導通されなくなり、水位センサ８４は、薬液タンク８１の水位が所定
位置よりも低いことを検出して検出信号を制御部１６３に出力する。水位センサ８４から
水位が所定位置よりも低いことを示す検出信号が入力されると、制御部１６３は、発熱部
８３ｂの加温を停止させる。
【０１４５】
　これにより、薬液タンク８１の薬液の水位が発熱部８３ｂの位置よりも低くなるとき、
内視鏡リプロセッサ１は、加温部８３による加温を停止させ、加温部８３の空焚きを防止
することができる。
【０１４６】
　（過加温時の加温部８３の加温停止）
　薬液タンク８１では、加温部８３によって薬液を加温することがある。
【０１４７】
　しかしながら、薬液が過加温状態になったとき、加温を停止しなければならないという
課題がある。
【０１４８】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、薬液が過加温状態になったとき、加温部８３の動
作を停止できるようにしている。
【０１４９】
　図２０は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の加温部８３の構成を説
明するための説明図である。
【０１５０】
　加温部８３の構成について、説明をする。
【０１５１】
　加温部８３は、温度センサ８５を有する。温度センサ８５は、薬液タンク８１内の薬液
の温度を検出し、検出結果を制御部１６３に出力する。制御部１６３は、ＣＰＵを有して
構成される第１の過加温検出部８６ａと、ＦＰＧＡによって構成される第２の過加温検出
部８６ｂとを有する。第１の過加温検出部８６ａ及び第２の過加温検出部８６ｂの各々は
、温度センサ８５から入力される薬液タンク８１内の薬液の温度を監視する。第１の過加
温検出部８６ａは、第２の過加温検出部８６ｂに接続され、第２の過加温検出部８６ｂは
、パワーリレー８６ｃに接続され、パワーリレー８６ｃは、ソリッドステートリレー８６
ｄに接続され、ソリッドステートリレー８６ｄは、サーモスタット８３ｃに接続され、サ
ーモスタット８３ｃは、発熱部８３ｂに接続される。第１の過加温検出部８６ａ又は第２
の過加温検出部８６ｂのいずれか一方が、薬液タンク８１内の薬液の過加温状態を検出す
ると、発熱部８３ｂによる加温は、停止する。したがって、第１の過加温検出部８６ａ及
び第２の過加温検出部８６ｂのいずれか一方が機能停止状態になっても加温を停止させる
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ことができる。
【０１５２】
　加温部８３は、サーモスタット８３ｃを有する。サーモスタット８３ｃは、薬液タンク
８１内の薬液の温度を検出し、薬液の温度が所定温度になると、発熱部８３ｂによる加温
を停止させる。
【０１５３】
　これにより、加温部８３では、薬液が過加温状態になったとき、加温を停止させること
ができる。
【０１５４】
　（加温部８３の脱落防止）
　加温部８３は、薬液タンク８１上部の加温部取付口８１ａから挿入される。
【０１５５】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、加温部８３が薬液タンク８１内に脱落しないよう
にしている。
【０１５６】
　図２１は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液タンク８１の加温
部取付口８１ａ及びフランジ８３ｄの構成を説明するための斜視図である。図２２は、本
考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液タンク８１の加温部取付口８１ａ
及びフランジ８３ｄの構成を説明するための上面図である。
【０１５７】
　薬液タンク８１の加温部取付口８１ａ及びフランジ８３ｄについて、説明をする。
【０１５８】
　加温部取付口８１ａは、薬液タンク８１の上部に設けられる。加温部取付口８１ａは、
互いに対向する２つの円弧状縁と、２つの円弧を繋ぐ２つの直線状縁と、によって形成さ
れる開口８１ｂを有する。加温部取付口８１ａは、直線状縁に沿うように、２つの直線状
縁の各々の外側に２つの突出部８１ｃが設けられる。加温部取付口８１ａは、開口８１ｂ
と突出部８１ｃの上から、ネジによって着脱自在の薬液タンクキャップが取り付けられる
。
【０１５９】
　フランジ８３ｄは、加温部８３の基端に設けられる。フランジ８３ｄは、加温部取付口
８１ａの開口８１ｂよりも一回り大きく形成され、加温部取付口８１ａの２つの突出部８
１ｃの間に収まるように形成される。
【０１６０】
　薬液タンクキャップを取り外し、発熱部８３ｂ及び支持部８３ａが薬液タンク８１内に
挿入されると、フランジ８３ｄは、加温部取付口８１ａの２つの突出部８１ｃの間に収ま
り、開口８１ｂの周囲に当て止めされる。
【０１６１】
　これにより、加温部８３の薬液タンク８１内への落下を防止できる。
【０１６２】
　（加温部８３の漏電防止）
　加温部８３の発熱部８３ｂは、制御部１６３の制御の下、発熱部８３ｂ内の配線に電流
を流され、ジュール熱によって薬液タンク８１内の薬液を加温する。
【０１６３】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、加温部８３内を流れる電流が薬液中に漏電しない
ようにしている。
【０１６４】
　図２３は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液タンク８１の加温
部８３の構成を説明するための説明図である。図２４、図２５、図２６は、本考案の実施
形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の薬液タンク８１の水位センサ８４の入力信号の波
形を説明するための波形図である。図２４、図２５、図２６では、縦軸が信号電圧（Ｖ）
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を示し、横軸が時間（ｔ）を示す。
【０１６５】
　薬液タンク８１は、水位センサ８７を有する。水位センサ８７は、電極式水位センサに
よって構成される。水位センサ８７では、少量の薬液でも水位を検出できるように、水位
センサ８７先端が薬液タンク８１の底部近傍に設けられる。水位センサ８７は、検出電極
８７ａ及び接地電極８７ｂを有し、検出電極８７ａ及び接地電極８７ｂ間に、所定の交流
電圧が印加される。
【０１６６】
　水位センサ８７は、検出電極８７ａ及び接地電極８７ｂの間の静電容量に応じ、検出電
極８７ａ及び接地電極８７ｂによって検出される検出信号の振幅が変化するように構成さ
れる。より具体的には、水位センサ８７では、検出電極８７ａ及び接地電極８７ｂの間の
静電容量が高いとき検出信号の振幅は大きくなり、両電極間の静電容量が低いとき検出信
号の振幅は小さくなる。例えば、水位センサ８７では、検出電極８７ａ及び接地電極８７
ｂの間に薬液が無いとき、図２４に示すような所定波形の検出信号が出力され、両電極間
に薬液があるとき、図２５に示すような所定波形の検出信号が出力される。
【０１６７】
　水位センサ８７は、制御部１６３に接続され、制御部１６３に検出信号を出力する。
【０１６８】
　制御部１６３は、水位センサ８７から入力される検出信号により、薬液が薬液タンク８
１に貯留されていることを検出できる。
【０１６９】
　破損等によって発熱部８３ｂ内の配線が薬液タンク８１内の薬液に触れると、発熱部８
３ｂに印加される電圧は、検出電極８７ａ及び接地電極８７ｂ間に印加される電圧に重畳
される。したがって、水位センサ８７では、図２６に示すような所定波形の検出信号が出
力される。
【０１７０】
　制御部１６３は、水位センサ８７から図２６に示すような所定波形の検出信号が入力さ
れると、破損等によって発熱部８３ｂ内の配線が薬液に触れていることを検出し、加温部
８３に対する電流の供給を停止させる。
【０１７１】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１では、破損等によって発熱部８３ｂ内の配線が薬液
タンク８１内の薬液に触れると、加温部８３に対する電流の供給を停止させ、発熱部８３
ｂ内の電流の漏電を防止することができる。
【０１７２】
　（洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂの誤取付け防止）
　内視鏡リプロセッサ１では、洗浄液やアルコール等の洗剤は、術者によって洗剤タンク
トレイ９２に取り付けられる洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂによって
供給される。
【０１７３】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３
ｂの誤取付けを防止するようにしている。
【０１７４】
　図２７は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の洗剤タンク１４３ａ及
びアルコールタンク１４３ｂ及び洗剤タンクトレイ９２の構成を説明するための説明図で
ある。図２７は、洗剤タンクトレイ９２の俯瞰図である。
【０１７５】
　洗剤タンク１４３ａ、アルコールタンク１４３ｂ及び洗剤タンクトレイ９２の構成につ
いて、説明をする。
【０１７６】
　内視鏡リプロセッサ１は、洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂと、洗剤
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タンクトレイ９２と、を有して構成される。
【０１７７】
　洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂの各々は、洗浄液やアルコール等の
洗剤を収納できるように構成される。洗剤タンク１４３ａは、断面四角形の四角柱状に形
成される。アルコールタンク１４３ｂは、断面略台形状の略台形柱状に形成される。洗剤
タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂの各々は、チューブ接続部９３を有し、チ
ューブによって内視鏡リプロセッサ１に接続される。
【０１７８】
　洗剤タンクトレイ９２は、内側に、インナートレイ９４ａ、９４ｂを有する。インナー
トレイ９４ａ、９４ｂは、洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂの各々を内
側に収容できるように、洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１４３ｂの各々の形状
に応じて形成される。より具体的には、インナートレイ９４ａは、洗剤タンク１４３ａを
内側に収容できるように、断面四角形状に形成され、インナートレイ９４ｂは、アルコー
ルタンク１４３ｂを内側に収容できるように、断面略台形状に形成される。したがって、
インナートレイ９４ａには、インナートレイ９４ａの形状に応じた洗剤タンク１４３ａが
収納され、インナートレイ９４ｂには、インナートレイ９４ｂの形状に応じたアルコール
タンク１４３ｂが収納される。
【０１７９】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１では、洗剤タンク１４３ａ及びアルコールタンク１
４３ｂの誤取付けを防止することができる。
【０１８０】
　（スタイラスホルダ３の構成）
　内視鏡リプロセッサ１は、操作パネル２１１に対する指示入力が簡便に行えるように、
スタイラスペン４を有する。
【０１８１】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、術者が、手袋が装置本体１１１に接触しないよう
に、装置本体１１１からスタイラスペン４を手に取ることができるようにしている。
【０１８２】
　スタイラスホルダ３の構成について、説明をする。
【０１８３】
　スタイラスホルダ３は、スタイラスペン４を保持できるように構成される。スタイラス
ホルダ３は、保持したスタイラスペン４の胴軸が装置本体１１１から突出するように、装
置本体１１１の側部の上部に取り付けられる。
【０１８４】
　スタイラスホルダ３は、上部開口と、胴部と、下部開口とを有する。上部開口は、スタ
イラスペン４を挿入できるように開口される。胴部は、上部開口から延設される。胴部内
側は、拡径して構成されるスタイラスペン４の首軸が当て止めされるように、下部開口へ
向かって窄まるテーパ状に形成される。下部開口は、胴部下端に設けられ、スタイラスペ
ン４の先端が当たらないように開口される。
【０１８５】
　これにより、スタイラスホルダ３は、胴軸が装置本体１１１から突出するようにスタイ
ラスペン４を保持し、術者は、手袋が装置本体１１１に接触しないように、装置本体１１
１からスタイラスペン４を手に取ることができる。
【０１８６】
　（スタイラスペン４の構成）
　内視鏡リプロセッサ１は、操作パネル２１１に対する指示入力が簡便に行えるように、
スタイラスペン４を有する。
【０１８７】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡Ｅとともに、スタイラスペン４についても
洗浄消毒できるようにしている。
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【０１８８】
　図２８は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１のスタイラスペン４の構
成を説明するための説明図である。
【０１８９】
　スタイラスペン４の構成について、説明をする。
【０１９０】
　図２８に示すように、スタイラスペン４は、保持網４１のピンに取り付けることができ
るように、胴軸に取付孔５を有する。
【０１９１】
　図３及び図４に示すように、内視鏡Ｅを処理槽２１にセットする際、スタイラスペン４
は、取付孔５によって保持網４１に取り付けられる。
【０１９２】
　これにより、スタイラスペン４は、内視鏡Ｅとともに、内視鏡リプロセッサ１によって
洗浄消毒がされる。
【０１９３】
　（配管関連）
　次に内視鏡リプロセッサ１の配管関連の工夫について説明する。
【０１９４】
　図２９は、内視鏡リプロセッサ１の内部の配管構成の一例を示す図である。
【０１９５】
　図２９に示すように、内視鏡リプロセッサ１において、水道栓１２１がチューブ１２２
ａを介して給水ホース接続口１２２に接続されている。給水ホース接続口１２２は、給水
管路１２３の一端と連通している。この給水管路１２３は、他端が三方電磁弁１２４に接
続されており、給水管路１２３の中途には、給水ホース接続口１２２側から順に、給水電
磁弁１２５と、逆止弁１２６と、給水フィルタ１２７とが介装されている。
【０１９６】
　なお、給水フィルタ１２７は、定期的に交換できるように、カートリッジタイプの濾過
フィルタとして構成されている。給水フィルタ１２７は、通過する水道水の異物、雑菌等
を除去する。
【０１９７】
　三方電磁弁１２４は、流液管路１２８の一端と接続されており、循環ノズル７１に対す
る給水管路１２３と流液管路１２８との連通を内部の弁によって切り替える。つまり、循
環ノズル７１は、三方電磁弁１２４の切り替え動作により、給水管路１２３と流液管路１
２８とのいずれか一方と連通する。また、流液管路１２８の他端側には、液体のみを移送
することができる、液体の移送能力に優れた非自吸式のポンプである流液ポンプ１２９が
介装されている。
【０１９８】
　処理槽２１に配設された循環口１３０は、循環管路１３１の一端に接続されている。循
環管路１３１の他端は、流液管路１２８の他端及びチャンネル管路１３２の一端と連通す
るように、２つに分岐している。チャンネル管路１３２の他端は、各コネクタ３１、３２
等及び漏水検知用コネクタ１３３、第２ノズル１３４に連通している。
【０１９９】
　チャンネル管路１３２の中途には、一端側から順に、チャンネルポンプ１３５、チャン
ネルブロック１３６、複数のチャンネル電磁弁１３７、開閉弁１３８がそれぞれ介装され
ている。
【０２００】
　チャンネルブロック１３６とチャンネル電磁弁１３７の間におけるチャンネル管路１３
２には、洗浄ケース５１と一端が接続しているケース用管路１３９の他端が接続されてい
る。このケース用管路１３９には、リリーフ弁１４０が介装されている。なお、チャンネ
ルポンプ１３５は、液体と気体とをどちらも、非自吸式ポンプよりも高圧で移送すること
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ができる自吸式のポンプから構成されている。
【０２０１】
　洗剤ノズル１４１は、洗浄剤管路１４２の一端と接続されており、洗浄剤管路１４２の
他端は、洗剤タンク１４３ａに接続されている。この洗浄剤管路１４２の中途に、洗浄剤
を洗剤タンク１４３ａから処理槽２１まで持ち上げるため高圧の自吸式のポンプから構成
された洗剤用ポンプ１４４が介装されている。
【０２０２】
　アルコールタンク１４３ｂは、アルコール管路１４５の一端と接続されており、このア
ルコール管路１４５はチャンネル管路１３２と連通するように、チャンネルブロック１３
６に接続されている。
【０２０３】
　このアルコール管路１４５には、アルコールをアルコールタンク１４３ｂから処理槽２
１まで持ち上げるため高圧の自吸式のポンプから構成されたアルコール供給ポンプ１４６
と、電磁弁１４７とが介装されている。
【０２０４】
　また、チャンネルブロック１３６には、気体を移送することができる自吸式ポンプから
構成された送気ポンプ１４８からの空気を供給するためのエア管路１４９の一端がチャン
ネル管路１３２と連通するように接続されている。このエア管路１４９は、他端が送気ポ
ンプ１４８に接続されており、エア管路１４９の中途位置には、逆止弁１５０と、定期的
に交換されるエアフィルタ１５１とが介装されている。
【０２０５】
　排出口１５２内には、弁の切り替え動作により、外部へ洗浄液等を排出したり、薬液タ
ンク８１に薬液を回収したりするための開閉自在な図示しない弁体が設けられている。
【０２０６】
　排出口１５２は、外部排液口へ接続される不図示の排水ホースと一端が接続されて連通
する排液管路１５３の他端と接続されており、この排液管路１５３には、非自吸式のポン
プから構成された排水ポンプ１５４が介装されている。また、排出口１５２は、薬液回収
管路１５５の一端と接続され、この薬液回収管路１５５の他端は薬液タンク８１に接続さ
れている。
【０２０７】
　薬液タンク８１は、薬液ボトル９１から薬液が供給されるように、薬液供給管路１５６
の一端とも接続されている。薬液タンク８１には、加温部８３が設けられている。
【０２０８】
　また、薬液タンク８１内には、一端に吸引フィルタ１５７が設けられた薬液管路１５８
の前記一端部分が収容されている。この薬液管路１５８は、他端が薬液ノズル６３に接続
されており、中途位置に、薬液を薬液タンク８１から処理槽２１まで引き上げるため高圧
の自吸式のポンプから構成された薬液移送部１５９が介装されている。
【０２０９】
　なお、処理槽２１の底面の下部には、例えば２つの振動部１６０と、ヒータ１６１とが
配設されている。
【０２１０】
　また、ヒータ１６１の温度調節のため、処理槽２１の底面の略中央には、温度検知セン
サ１６１ａが設けられている。
【０２１１】
　また、内視鏡リプロセッサ１の内部には、外部のＡＣコンセントから電力が供給される
電源１６２と、この電源１６２と電気的に接続される制御部１６３が設けられている。
【０２１２】
　この制御部１６３は、内視鏡リプロセッサ１に設けられたメインの操作パネル２１１及
びサブ操作パネル（図示せず）からの各種信号が供給され、上述した各ポンプ、各電磁弁
などを駆動制御する。
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【０２１３】
　（漏水検知用コネクタの劣化対策）
　図２９では図示しないが、内視鏡リプロセッサ１には自動漏水検知装置が設けられてい
る。自動漏水検知装置は、内視鏡の内部空間に送気して内視鏡の内部空間の圧力変化を検
出することにより、内視鏡の所謂リークテストを自動的に行う。
【０２１４】
　リークテスト時に用いられ、一端が内視鏡のリークテストポートに接続されたチューブ
の他端が接続される漏水検知用コネクタ１３３は、内部にＯリングなどのシール構造を有
している。しかし、Ｏリングの劣化などがあると、漏水検知用コネクタ１３３が水没した
ときに、漏水検知用コネクタ１３３内に液体が浸入する。漏水検知用コネクタ１３３から
浸入した液体が、漏水検知用コネクタ１３３に接続された通気チューブ内に浸入して、自
動漏水検知装置に流れ込むと、自動漏水検知装置が故障する虞がある。
【０２１５】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１内の通気チューブと排水チューブの分岐部に高低差を設
けることにより、液体が通気チューブ内に浸入するのを防止する。
【０２１６】
　図３０は、漏水検知用コネクタに接続される自動漏水検知装置１０２Ａに連通する管路
と排水用管路の管路の構造を示す図である。
【０２１７】
　漏水検知用コネクタ１３３に接続された管路部材１０１は、通気チューブ１０２との接
続部１０１ａと、排水チューブ１０３との接続部１０１ｂを有している。通気チューブ１
０２の一端は、自動漏水検知装置１０２Ａが接続されている。排水チューブ１０３には、
開閉弁１０３Ａが接続されている。
【０２１８】
　管路部材１０１は、直線状に延びた形状を有し、重力方向において、接続部１０１ａよ
りも下方に接続部１０１ｂが設けられている。接続部１０１ａは、管路部材１０１の途中
において、管路部材１０１の中心軸に直交する方向に延出するように形成されている。通
気チューブ１０２の他端は、接続部１０１ａに接続されている。
【０２１９】
　排水チューブ１０３の一端は、接続部１０１ｂに接続され、排水チューブ１０３の他端
は、開閉弁１０３Ａに接続され、排水チューブ１０３に浸入した液体は、水受け部１０３
Ｂで受けるようになっている。水受け部１０３Ｂには、電極１０３Ｃが配設され、水受け
部１０３Ｂの浸水を検知できるようになっている。自動漏水検知装置１０２Ａは、排水チ
ューブ１０３に接続された開閉弁１０３Ａを閉じた状態で、通気チューブ１０２に送気す
ることにより、漏水検知が行われ、自動漏水検知を行わないとき、その開閉弁１０３Ａは
、開かれている。
【０２２０】
　図３０に示すように、接続部１０１ａは、接続部１０１ｂよりも重力方向において高い
位置に、形成あるいは配置される。
【０２２１】
　よって、漏水検知用コネクタ１３３を介して管路部材１０１内に浸入した液体は、接続
部１０１ａを介して通気チューブ１０２内に浸入することなく、接続部１０１ｂへ流れ込
む。
【０２２２】
　図３１は、漏水検知用コネクタ１３３に接続される自動漏水検知装置１０２Ａに連通す
る管路と、排水用管路の他の構造の例を示す図である。管路部材１０１Ａは、直線状に延
びた部分の下部に、管路部材１０１の中心軸に直交する方向に湾曲した接続部１０１ｂが
設けられている。
【０２２３】
　図３１においても、接続部１０１ａは、接続部１０１ｂよりも重力方向において高い位
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置に、形成あるいは配置される。よって、図３１においても、漏水検知用コネクタ１３３
を介して管路部材１０１Ａ内に浸入した液体は、接続部１０１ａを介して通気チューブ１
０２内に浸入することなく、接続部１０１ｂへ流れ込む。
【０２２４】
　（濯ぎ水の採取の容易化）
　内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡の再処理を行うときに、消毒工程と、それに続く複数
回の濯ぎ工程を実行する。
【０２２５】
　ユーザは、濯ぎ水が適切な水、すなわち所謂綺麗な水、であるかを確認する。
【０２２６】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、濯ぎ工程が途中で停止し、ユーザがトップカバー
１１を開けられるようになっている。例えば、濯ぎが３回行われる場合、最後の回の濯ぎ
工程において、ユーザがトップカバー１１を開けられるようにして、ユーザに濯ぎ水の採
取が可能であることを表示あるいは音などで知らせるようになっている。この動作は、内
視鏡リプロセッサ１の制御部１６３により実現される。
【０２２７】
　具体的には、例えば、内視鏡リプロセッサ１の制御部１６３は、濯ぎ工程を実行中に、
処理槽２１に濯ぎ水が溜まった段階で、濯ぎ工程を一時的に停止し、かつトップカバー１
１をユーザが開けられるようにプログラムされ、さらに、ユーザに、トップカバー１１を
開けて、濯ぎ水の採取が可能であることを告知する動作を実行する。
【０２２８】
　結果として、その告知に応じて、ユーザは、トップカバー１１を開けて、処理槽２１に
溜まっている濯ぎ水を、カップ等を用いて簡単に採取することができる。
【０２２９】
　（各種弁の故障検知）
　各弁が故障して完全に閉じることができないと、洗浄消毒工程を確実に実行することが
できない。
【０２３０】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１では、流量センサを用いて、当該弁の故障を検知するよ
うになっている。
【０２３１】
　はじめに、弁の故障検知を説明するための内視鏡リプロセッサの概略配管構成を説明す
る。
【０２３２】
　図３２は、内視鏡リプロセッサの配管構成を概略的に示すブロック図である。図３２の
配管構成は、上述した図２９の配管構成とは異なる。
【０２３３】
　ここでは、内視鏡リプロセッサ１にて２本の内視鏡を洗浄消毒する構成を例に挙げて説
明する。
【０２３４】
　内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡Ｅ１、Ｅ２の外表面及び各内視鏡Ｅ１、Ｅ２が具備す
る管路内を洗浄消毒する。図３２に示すように、内視鏡リプロセッサ１は、装置本体１１
１において内視鏡Ｅ１、Ｅ２が収容可能な処理槽２１を具備している。
【０２３５】
　また、装置本体１１１の処理槽２１に臨む位置には、複数のチューブＴを介して内視鏡
Ｅ１の複数の管路と接続される送気送水用コネクタ３１、３２、３５、３６が設けられて
いる。
【０２３６】
　同様に、装置本体１１１の処理槽２１に臨む位置には、複数のチューブＴを介して内視
鏡Ｅ２の複数の管路と接続される送気送水用コネクタ３３、３４、３７、３８が設けられ



(24) JP 3205321 U 2016.7.21

10

20

30

40

50

ている。
【０２３７】
　さらに、送気送水用コネクタ３１、３２、３５、３６には、それぞれ送気送水用コネク
タ３１、３２、３５、３６に通じる流路を閉じるまたは開く複数の弁Ｖが設けられている
。
【０２３８】
　よって、各弁Ｖの開閉に伴い、チューブＴを介した内視鏡Ｅ１の各管路内への液体の供
給と遮断が切り替えられるようになっている。なお、液体としては、洗浄液、消毒液、ア
ルコール、濯ぎ水、または気相と液相とが混合してなる気液２相流体等が挙げられる。
【０２３９】
　同様に、送気送水用コネクタ３３、３４、３７、３８には、それぞれ送気送水用コネク
タ３３、３４、３７、３８に通じる流路を閉じるまたは開く弁Ｖが設けられている。
【０２４０】
　よって、各弁Ｖの開閉に伴い、チューブＴを介した内視鏡Ｅ２の各管路内への液体の供
給と遮断が切替られるようになっている。
【０２４１】
　なお、各弁Ｖは、例えば開閉自在なソレノイド弁から構成されている。また、各弁Ｖの
開閉動作は、装置本体１１１内に設けられた制御部１６３によって制御されている。
【０２４２】
　また、装置本体１１１内には、一端が、各送気送水用コネクタ３０に接続された送流体
管路１７１が設けられている。なお、送流体管路１７１の他端には、チャンネル（ＣＨ）
ブロック１７２が設けられているとともに、送流体管路１７１の中途位置には流量測定部
である流量センサ１７３が配設されている。更に、ＣＨブロック１７２を送流体管路１７
１の上流とすると、上流側から順に、流量センサ１７３、次にＣＨブロック１７４、その
次にＣＨブロック１７５とが送流体管路１７１に配設されている。
【０２４３】
　装置本体１１１内において、ＣＨブロック１７２には、液体供給管路１７６の一端が接
続されている。なお、液体供給管路１７６の他端は、処理槽２１に設けられた循環口１３
０に接続されている。また、液体供給管路１７６の中途位置には、後述する制御部１６３
の動作制御によって駆動するチャンネルポンプ１７７が配設されている。
【０２４４】
　また、装置本体１１１内において、送流体管路１７１の他端の、例えばＣＨブロック１
７２には、大気開放管路１７８の一端が接続されている。
【０２４５】
　大気開放管路１７８の他端は後述する切替弁１７９に接続されており、後述する排水管
路１８０、排出口１５２を介して処理槽２１に大気開放されている。なお、大気開放管路
１７８の中途位置には、大気開放管路１７８を閉じるまたは開くことができる弁１８１が
設けられている。
【０２４６】
　弁１８１は、例えば開閉自在なソレノイド弁から構成されている。また、弁１８１の開
閉動作は、装置本体１１１内に設けられた制御部１６３によって制御されている。
【０２４７】
　弁１８１は、送流体管路１７１、液体供給管路１７６内の圧力が高くなってしまうと、
停止中のチャンネルポンプ１７７や、図示しないコンプレッサが再起動しなくなってしま
うことから、送流体管路１７１、液体供給管路１７６内の圧力が所定の圧力以上とならな
いよう、チャンネルポンプ１７７やコンプレッサの駆動前に大気開放管路１７８、排水管
路１８０を介して排出口１５２から圧力を逃すものである。
【０２４８】
　なお、弁１８１は、チャンネルポンプ１７７やコンプレッサの駆動前、及び内視鏡Ｅ１
、Ｅ２の管路内の詰まり検出や、弁１８２の故障検知の際に開かれ、所定の目的以外では
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閉じるよう制御部１６３によって制御されている。これは、洗浄消毒工程において、送気
送水用コネクタ３０から内視鏡Ｅ１、Ｅ２の各管路内に液体を供給する際、弁１８１が開
かれていると内視鏡Ｅ１、Ｅ２の各管路内への液体の送液圧が弱くなってしまうためであ
る。
【０２４９】
　また、装置本体１１１において、切替弁１７９は、処理槽２１に設けられた排出口１５
２に一端が接続された排水管路１８０の中途位置に配置されている。なお、排水管路１８
０他端は、装置本体１１１外に位置する。また、排水管路１８０において、排水管路１８
０の他端と切替弁１７９との間には、後述する制御部１６３の動作制御によって駆動する
排水ポンプ１８３が配置されている。
【０２５０】
　また切替弁１７９には、一端が薬液タンク８１に接続された消毒液管路１８４の他端が
接続されている。
【０２５１】
　切替弁１７９は、排水ポンプ１８３の駆動によって処理槽２１から排出口１５２、排水
管路１８０を介して排出された液体を、排水管路１８０の他端から装置本体１１１外に排
出するか、液体が消毒液であれば、消毒液管路１８４を介して薬液タンク８１に回収する
か否かを後述する制御部１６３の動作制御によって切り替える弁である。
【０２５２】
　流量センサ１７３は、送流体管路１７１を通過する液体の流量を測定するものであり、
例えば既知の流量計から構成されている。
【０２５３】
　また、装置本体１１１内において、ＣＨブロック１７４には、循環管路１８５の一端が
後述する制御部１６３によって開閉制御されるポンプ弁１８６を介して接続されており、
循環管路１８５の他端は、装置本体１１１における処理槽２１に臨む位置に設けられた循
環ノズル７１に接続されている。
【０２５４】
　循環ノズル７１は、チャンネルポンプ１７７の駆動により、処理槽２１内の液体を、循
環口１３０、液体供給管路１７６、送流体管路１７１、循環管路１８５を介して、再度処
理槽２１に供給するためのものである。
【０２５５】
　また、装置本体１１１内では、送流体管路１７１において、送流体管路１７１の一端と
流量センサ１７３との間の位置、例えばＣＨブロック１７５には、大気開放管路１８７の
一端が接続されている。
【０２５６】
　大気開放管路１８７の他端は、処理槽２１に設けられた洗浄ケース５１に接続されるこ
とにより洗浄ケース５１を介して大気開放されている。洗浄ケース５１は、内視鏡Ｅ１、
Ｅ２から取り外された釦等が収容されるものである。なお、大気開放管路１８７の他端は
、洗浄ケース５１に接続されていなくとも良く、単に処理槽２１内に開放されているだけ
でも良い。
【０２５７】
　また、装置本体１１１内において、大気開放管路１８７の中途位置には、設定圧力によ
り開くリリーフ弁１８８が配置されているとともに、大気開放管路１８７を閉じるまたは
開く弁１８２が配置されている。
【０２５８】
　なお、弁１８２は、例えば開閉自在なソレノイド弁から構成されている。また、弁１８
２の開閉動作は、装置本体１１１内に設けられた後述する制御部１６３によって制御され
ている。
【０２５９】
　さらに、弁１８２は、内視鏡Ｅ１、Ｅ２の管路内の詰まり検出を行う場合及び弁１８２
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の故障検知を行う場合、及び内視鏡に溜められた液体を一気に押し出す際に閉じるよう制
御部１６３によって制御される。つまり、弁１８２は、送気送水コネクタ３０を介して内
視鏡Ｅ１、Ｅ２の管路内へ液体を供給することにより行う管路内の洗浄消毒工程において
は開かれている。
【０２６０】
　リリーフ弁１８８は、送気送水コネクタ３０を介して内視鏡Ｅ１、Ｅ２の各管路内へ液
体を供給することにより行う管路内の洗浄消毒工程において、管路内に詰まりが有る場合
に、設定圧力にて開くことにより、送流体管路１７１及び液体供給管路１７６内の圧力を
、液体とともに大気開放管路１８７を介して処理槽２１に逃がすものである。
【０２６１】
　次に、弁の故障検知について説明する。
【０２６２】
　内視鏡リプロセッサ１では、内部の弁の故障を検知するために、流量センサが用いられ
る。ここでは、ポンプ弁１８６をチェックするために、流量センサ１７３が用いられる例
を説明する。
【０２６３】
　制御部１６３は、各弁Ｖ及び弁１８２を閉じ、且つポンプ弁１８６を閉じ、弁１８１を
開いた状態で、チャンネルポンプ１７７を駆動して、流量センサ１７３の出力を監視する
ことによって、ポンプ弁１８６の故障を判定する。
【０２６４】
　ポンプ弁１８６が完全に閉じていると、チャンネルポンプ１７７からの液体は、ＣＨブ
ロック１７２と弁１８１と切替弁１７９を通して流れると共に、流量センサ１７３の出力
は、０（ゼロ）となる。
【０２６５】
　ポンプ弁１８６が故障して完全に閉じることができないとき、流量センサ１７３の出力
は、０（ゼロ）ではなくなるので、制御部１６３は、ポンプ弁１８６の故障を検知するこ
とができる。
【０２６６】
　すなわち、弁と流量センサが流路に配置されるようにして、弁を閉じたときに流量セン
サの出力に基づいて、弁が完全に閉じているかのチェックを行うことができる。
【０２６７】
　このように、弁と流量センサが設けられた流路を利用して、弁の故障が判定される。
【０２６８】
　なお、図３２において点線で示すように、ＣＨブロック１７２と１７４の間にバイパス
路１７１Ａを設け、そのバイパス路１７１Ａに弁１８６Ａが設けられている。この場合も
、弁１８６Ａのチェックを、流量センサ１７３の出力に基づいて行うことができる。
【０２６９】
　制御部１６３は、各弁Ｖ及び弁１８２を閉じ、且つポンプ弁１８６を開け、チャンネル
ポンプ１７７を駆動して、流量センサ１７３の出力を監視することによって、弁１８６Ａ
の故障を判定することができる。なお、弁１８１は、閉じていても開いていてもよい。
【０２７０】
　弁１８６Ａが完全に閉じていると、チャンネルポンプ１７７からの液体は、ＣＨブロッ
ク１７２と流量センサ１７３を通して流れて、流量センサ１７３の出力は、所定の流量と
なる。この所定の流量とは、チャンネルポンプ１７７により吐出される液体の流量である
。
【０２７１】
　弁１８６Ａが故障して完全に閉じることができないとき、バイパス路１７１Ａにも液体
は流れて、流量センサ１７３の出力は、所定の流量よりも少なくなるので、制御部１６３
は、弁１８６Ａの故障を検知することができる。
【０２７２】
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　（内視鏡への流量の確保）
　図３２のリリーフ弁１８８は、流体の圧力が所定の圧力以上にならないようにするため
に設けられるが、図３２に示すように、ここでは、リリーフ弁１８８は、内視鏡内の管路
と接続される複数のチューブＴに近く、チャンネルポンプ１７７からは所定距離離れた箇
所に設けられている。
【０２７３】
　内視鏡内の各種管路を壊さないために、内視鏡内の各種管路に流す液体の圧力は、一定
値以下にしなければならない。そのためにリリーフ管路が設けられるが、リリーフ管路が
送液ポンプの近くにあると、リリーフ管路に流れる液体の方が、内視鏡内の各種管路に流
れる液体よりも、相対的に多くなり、内視鏡内の各種管路に流れる液体の流量が減少して
、内視鏡内の各種管路の洗浄力が低下してしまう。
【０２７４】
　そこで、リリーフ弁１８８は、内視鏡内の管路と接続される複数のチューブＴに近く、
チャンネルポンプ１７７からは遠い箇所に設けられている。
【０２７５】
　このような構成により、内視鏡内の管路を破壊しないように所定の圧力以上の液体が内
視鏡内の管路に流れ、内視鏡内の各種管路の洗浄力が低下しない。
【０２７６】
　（漏水検知の自動化と大気圧を考慮したリーク量検出）
　内視鏡の外皮あるいは筐体に割れ等があると、薬液などが内視鏡の内部に浸入して、内
視鏡の故障の原因となるため、内視鏡リプロセッサ１では、リークテストすなわち内視鏡
の漏水検知が行われる。
【０２７７】
　内視鏡リプロセッサ１では、漏水検知が自動化されている。図３２においては、内視鏡
リプロセッサ１には、図示しない自動漏水検知装置が備わっている。
【０２７８】
　図３３は、内視鏡リプロセッサ１に設けられる自動漏水検知装置３００の構成を示す構
成図である。
【０２７９】
　漏水検知用コネクタ１３３Ａと１３３Ｂは、内視鏡Ｅ１とＥ２の内部空間に連通する２
つのコネクタ（図示せず）に、それぞれチューブを介して接続される。
【０２８０】
　自動漏水検知装置３００は、エアポンプ３１１と、配管３１２、３１３、３１４、３２
０と、フィルタ３１５と、締切弁３１６、３１７、３２１と、圧力センサ３１８、３１９
、３２２、３２３とを含んで構成されている。
【０２８１】
　自動漏水検知装置３００のエアポンプ３１１は、配管３１２に接続されている。配管３
１２は、漏水検知用コネクタ１３３Ａに接続された配管３１３と、漏水検知用コネクタ１
３３Ｂに接続された配管３１４とに接続されている。
【０２８２】
　配管３１２には、フィルタ３１５が配設されている。配管３１３には、締切弁３１６が
介装されている。配管３１４には、締切弁３１７が介装されている。
【０２８３】
　締切弁３１６と漏水検知用コネクタ１３３Ａの間の配管３１３には、圧力センサ３１８
が設けられている。締切弁３１７と漏水検知用コネクタ１３３Ｂの間の配管３１４には、
圧力センサ３１９が設けられている。
【０２８４】
　配管３１２には配管３２０が接続されている。配管３２０には、排気弁である締切弁３
２１が介装されている。
【０２８５】
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　配管３１２には、圧力センサ３２２が設けられている。さらに、自動漏水検知装置３０
０には、大気圧を測定するための圧力センサ３２３が配設されている。
【０２８６】
　以上のような構成の自動漏水検知装置３００のエアポンプ３１１及び各弁の動作は、制
御部１６３により制御され、各圧力センサの出力信号は、制御部１６３に受信される。
【０２８７】
　図３４は、制御部１６３により実行される自動漏水検知装置３００の動作を示すフロー
チャートである。図３５は、圧力センサ３１８又は３１９の圧力変化の例を示すグラフで
ある。
【０２８８】
　はじめに、締切弁３１６及び３１７を開いた状態で、締切弁３２１が閉じられる（ステ
ップ（以下Ｓと略す）１）。その後、エアポンプ３１１を駆動する（Ｓ２）。
【０２８９】
　そして、制御部１６３は、エアポンプ３１１の駆動時刻ｔ０から所定時間経過した時刻
ｔ１において、エアポンプ３１１を停止して、締切弁３１６と３１７を閉じる（Ｓ３）。
【０２９０】
　図３５に示すように、時刻ｔ０から時刻ｔ１まで、圧力センサ３１８及び３１９の検出
圧力値はそれぞれ上昇していく。
【０２９１】
　制御部１６３は、配管３１３及び３１４内の圧力が安定するまで、時刻ｔ１から所定時
間ＰＴだけ待機して、その状態を保持する（Ｓ４）。
【０２９２】
　制御部１６３は、圧力が安定した時刻ｔ２から、測定工程時間となる所定時間Ｓｔが経
過する時刻ｔ３までの間、圧力センサ３１８及び３１９の出力信号を監視し、圧力センサ
３１８及び３１９の、時刻ｔ２と時刻ｔ３のそれぞれの圧力値を検出する（Ｓ５）。すな
わち、時刻ｔ２とｔ３における、圧力センサ３１８及び３１９の出力値を検出する。
【０２９３】
　内視鏡Ｅ１あるいはＥ２において空気の漏洩があると、図３５において、時刻ｔ１以降
、圧力センサ３１８あるいは３１９の出力値は低下する。図３５は、内視鏡Ｅ１あるいは
Ｅ２において空気の漏洩があった場合の圧力変化を示している。
【０２９４】
　時刻ｔ３において圧力検出が終了すると、制御部１６３は、各締切弁３１６、３１７、
３２１を開けて、各配管３１２、３１３、３１４内の高い圧力の空気を排気する（Ｓ６）
。
【０２９５】
　その後、制御部１６３は、内視鏡Ｅ１とＥ２のそれぞれについて、Ｓ５で検出した時刻
ｔ２と時刻ｔ３における圧力値から、リーク量の算出と、漏洩の判定を行う（Ｓ７）。
【０２９６】
　各内視鏡のリーク量Ｒの算出は、次の式による。
【０２９７】
　Ｒ＝Ｖ・（Ｐ１－Ｐ２）／Ｐ０・６０／Ｓｔ　　　・・・　（１）
　ここで、Ｖは、全体内容量であり、全体内容量は、内視鏡Ｅ１あるいはＥ２の内部空間
の内容量と、自動漏水検知装置３００内の配管などの内容量の和である。
【０２９８】
　Ｐ１は、時刻ｔ２における圧力値、すなわち測定工程の開始時圧力値である。Ｐ２は、
時刻ｔ３における圧力値、すなわち測定工程の終了時圧力値である。Ｐ０は、大気圧セン
サである圧力センサ３２３の検出値である。Ｓｔは、測定工程時間である。
【０２９９】
　制御部１６３は、各内視鏡Ｅ１、Ｅ２について、算出されたリーク量Ｒが所定の閾値を
超えていなければ、リーク無しであると判定し、算出されたリーク量Ｒが所定の閾値を超
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えているとき、リーク有りと判定し、ユーザにメッセージ表示等により告知する。
【０３００】
　以上のように、各内視鏡内の圧力を一定の圧力まで加圧した後、各内視鏡に繋がる締切
弁を閉じ、かつ一定時間だけ待って圧力変動が収まるようにしてから、各内視鏡の内部空
間内の圧力変化量を測定して、リークの有無を判定している。
【０３０１】
　以上のように、内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡の漏水検知を自動でかつ正確に行うこ
とができる。
【０３０２】
　なお、圧力センサ３１８、３１９、３２２は大気圧を基準としたゲージ圧を測定する。
大気圧は、内視鏡リプロセッサ１が使用される場所、季節によって、内視鏡リプロセッサ
１の使用環境の圧力が異なる。
【０３０３】
　そこで、ここでは、上述した式（１）に示すように、ゲージ圧を大気圧を用いて補正し
て、リーク量Ｒを正確に算出される。よって、内視鏡リプロセッサ１は、漏水検知を正確
に行うことができる。
【０３０４】
　（漏水検知装置の自己診断機能）
　自動漏水検知装置３００自体に異常があると、内視鏡の漏水検知が正確に行われない。
【０３０５】
　そこで、漏水検知処理を行う前、あるいは定期的に、内視鏡リプロセッサ１は、自動漏
水検知装置３００の自己診断を行うようにしている。
【０３０６】
　図３６は、自動漏水検知装置３００の自己診断の処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【０３０７】
　制御部１６３は、はじめに、各圧力センサ３１８、３１９、３２２のキャリブレーショ
ンを行う（Ｓ１１）。キャリブレーションは、例えば、各締切弁３１６、３１７、３２１
を開けて、大気圧センサである圧力センサ３２３の圧力と一致するように各圧力センサ３
１８、３１９の較正をすることによって行われる。
【０３０８】
　次に、制御部１６３は、エアポンプ３１１を駆動して流量異常のチェックを行う（Ｓ１
２）。具体的には、例えば締切弁３１６のみを開けて、配管３１３内の圧力を測定するこ
とによって、エアポンプ３１１の吐出量を測定することによって、流量異常のチェックが
行われる。
【０３０９】
　そして、制御部１６３は、Ｓ１２で測定した圧力値から、エアポンプ３１１の能力を算
出して測定する（Ｓ１３）。
【０３１０】
　さらに、各締切弁を順番に１つずつ閉じるように駆動して、各時点における圧力センサ
の検出圧力から、各締切弁の駆動異常のチェックが行われる（Ｓ１４）。圧力センサの検
出圧力が所定値以下のときには、締切弁が正しく閉じていないか、対応する配管に漏れが
あると考えられる。
【０３１１】
　制御部１６３は、Ｓ１４のチェック結果から各配管のリーク異常の有無を判定する（Ｓ
１５）。
【０３１２】
　以上の自動漏水検知装置３００の自己診断処理を実行することによって、自動漏水検知
装置３００自体の異常の有無が判定され、自動漏水検知装置３００に異常がないと判定さ
れると、漏水検知処理が実行可能とされるので、漏水検知処理が正確に行われる。
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【０３１３】
　（薬液タンクの濃度のバラツキ解消の処理）
　上述したように、薬液ノズル６３内に薬液を貯留させることによって、簡単に薬液を採
取して、薬効確認のための薬液の濃度が測定できるようになっているが、薬液ノズル６３
内の薬液と、薬液タンク８１内の薬液とは、それぞれ周囲環境に晒されている状況が異な
る。例えば、装置本体１１１外に配設された薬液ノズル６３内の薬液は、装置本体１１１
内に配設された薬液タンク８１内の薬液よりは、蒸発し易い。また、装置本体１１１内に
配設された薬液タンク８１内の薬液の温度は、薬液ノズル６３内の薬液の温度と異なる場
合もある。温度によって、薬液の劣化の進行度合いは異なる。
【０３１４】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１は、薬液ノズル６３からの薬液の吐出がない状態が所定
の期間なかったときは、制御部１６３は、操作パネル２１１の画面上に、ユーザに所定の
警告表示を行い、内視鏡リプロセッサ１内の薬液を循環させるように促す。
【０３１５】
　図３７は、薬液の循環を説明するための図である。
【０３１６】
　図３７は、３つの状態ＳＴ１、ＳＴ２、ＳＴ３を示している。状態ＳＴ１は、薬液ノズ
ル６３からの薬液の吐出がなくなった直後の状態を示している。薬液ノズル６３からの薬
液の吐出がない状態が続くと、薬液ノズル６３内の薬液の濃度ｄＮと、薬液タンク８１の
内の薬液の濃度ｄＴとの間に差が生じてくる。
【０３１７】
　状態ＳＴ２は、薬液ノズル６３内の薬液の濃度ｄＮと、薬液タンク８１の内の薬液の濃
度ｄＴとの間に差が生じている状態を示す。
【０３１８】
　薬液の吐出がない状態が長く続くと、薬液ノズル６３内の薬液の濃度を測定しても、薬
液タンク８１内の薬液の濃度とは大きく異なっている場合がある。
【０３１９】
　そこで、制御部１６３は、薬液移送部１５９を最後に駆動した時から、所定期間ＰＰが
経過すると、薬液の循環を促すメッセージ表示などを操作パネル２１１の画面上に行う告
知処理を行う。
【０３２０】
　状態ＳＴ２において、ユーザがその告知に応じて、操作パネル２１１に対して薬液循環
のための動作指示の操作を行うと、薬液移送部１５９が駆動して、薬液ノズル６３から薬
液が吐出され、薬液ノズル６３と薬液タンク８１間で薬液の循環が行われる。
【０３２１】
　状態ＳＴ３は、薬液ノズル６３と薬液タンク８１間で薬液の循環が行われている状態を
示す。
【０３２２】
　所定期間ＰＰは、薬液ノズル６３内の薬液の濃度ｄＮと薬液タンク８１の内の薬液の濃
度ｄＴとの間に差が大きくならない程度の時間に設定される。その結果、薬液ノズル６３
から採取した薬液の濃度は、正確なものとなる。
【０３２３】
　（送液時の正確な流量の測定）
　本考案の内視鏡リプロセッサ１では、互いに精度保証流量範囲が異なる複数の流量セン
サを設けている。これにより、異なるサイズの内視鏡であってもそれぞれ精度よく測定す
ることができる。
【０３２４】
　上述した図３２を用いて説明する。図３２では、流量センサ１７３とは別に、二点鎖線
で示す第２の流量センサ１７３ａが送流体管路１７１に設けられている。
【０３２５】
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　例えば、流量センサ１７３は、送液時の流量の小さなタイプの内視鏡に合わせて選定さ
れたセンサであり、流量センサ１７３ａは、送液時の流量の大きいタイプの内視鏡に合わ
せて選定されたセンサである。
【０３２６】
　制御部１６３は、２つの流量センサ１７３と１７３ａの検出信号を受信しており、接続
された内視鏡のタイプ、あるいは送液される管路、等々の情報に基づいて、流量測定に用
いる検出信号を、２つの流量センサ１７３、１７３ａのうちのいずれかの検出信号から選
択する。
【０３２７】
　なお、ここでは、互いに精度保証流量範囲が異なる２つの流量センサが用いられている
が、互いに精度保証流量範囲が異なる３つ以上の流量センサを用いてもよい。
【０３２８】
　結果として、互いに精度保証流量範囲が異なる複数の流量センサを用いているため、接
続される内視鏡の液体の流量が小さいものであっても大きいものであって、送液流量を精
度良く測定することができる。
【０３２９】
　（リプロセス工程完了時のユーザＩＤの入力）
　内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡Ｅの再生処理の開始時、すなわち、リプロセス工程の
開始時に操作パネル２１１を用いてユーザＩＤの入力を行っている。
【０３３０】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス工程の完了時にユーザＩＤの入力をでき
るようにしている。まず、内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス工程の開始時にトップカ
バー１１のロックをかける。内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス工程が終了すると、ユ
ーザＩＤを入力させるためのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵＩ）であるユ
ーザＩＤ入力画面を操作パネル２１１に表示する。操作パネル２１１に表示されるユーザ
ＩＤ入力画面は、制御部１６３によって生成され、操作パネル２１１に出力される。
【０３３１】
　内視鏡リプロセッサ１は、ユーザＩＤ入力画面を操作パネル２１１に表示している段階
においても、トップカバー１１のロックをかけた状態で維持する。内視鏡リプロセッサ１
は、ユーザが操作パネル２１１に表示されたユーザＩＤ入力画面においてユーザＩＤを入
力すると、リプロセス工程の完了を示す完了画面を操作パネル２１１に表示する。そして
、内視鏡リプロセッサ１は、ユーザがユーザＩＤ入力画面においてユーザＩＤを入力する
と、トップカバー１１のロックを解除し、内視鏡Ｅを処理槽２１から取り出せるようにす
る。
【０３３２】
　この結果、内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス完了時にユーザＩＤを残せるようにす
ることができる。また、内視鏡リプロセッサ１は、ユーザがユーザＩＤ入力画面において
ユーザＩＤを入力後にトップカバー１１のロックを解除するため、ユーザＩＤの入力忘れ
を防止することができる。
【０３３３】
　（フィルタ交換作業の容易化）
　内視鏡リプロセッサ１は、給水フィルタ１２７及び給水管路１２３を備えているが、給
水フィルタ１２７の交換、及び、給水管路の消毒等の作業を定期的に行う必要がある。
【０３３４】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、作業内容に応じたガイドを操作パネル２１１に表示
するようにしている。ユーザが操作パネル２１１に表示された所定の項目から例えば給水
フィルタ１２７の項目を選択すると、内視鏡リプロセッサ１は、給水フィルタ１２７の交
換作業に応じたガイドを操作パネル２１１に表示する。さらに、ガイドが表示された状態
において操作パネル２１１に表示されている詳細ボタンをユーザが押下すると、内視鏡リ
プロセッサ１は、給水フィルタ１２７の交換作業の詳細な指示を操作パネル２１１に表示
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する。
【０３３５】
　この結果、ユーザは操作パネル２１１に表示された指示に従って給水フィルタ１２７の
交換作業を行うことができ、給水フィルタ１２７の交換作業を容易に行うことができる。
【０３３６】
　なお、内視鏡リプロセッサ１は、給水フィルタ１２７の交換作業、及び、給水管路１２
３の消毒作業に限定されることなく、例えば、エアフィルタ１５１の交換作業、ガスフィ
ルタの交換作業のガイドを操作パネル２１１に表示してもよい。
【０３３７】
　（フィルタ交換日時の管理）
　内視鏡リプロセッサ１は、定期的に交換が必要なエアフィルタ１５１を備えている。エ
アフィルタ１５１の交換日時は、交換日時が書き込まれたシールを内視鏡リプロセッサ１
の所定の位置に貼ることで管理している。
【０３３８】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、エアフィルタ１５１を交換した時に、次の交換日時
を設定するための設定画面を操作パネル２１１に表示する。ユーザは設定画面を操作して
所定の期間を設定する。この所定の期間は、例えば３０日に設定されているが、変更可能
である。
【０３３９】
　内視鏡リプロセッサ１は、内部のカウンタ機能を用いて所定の期間をカウントし、所定
の期間を過ぎると、操作パネル２１１に警告画面を表示し、ユーザに交換日時が過ぎたこ
とを報知する。この結果、ユーザはエアフィルタ１５１の交換日時が過ぎたことを直ちに
認識し、エアフィルタ１５１の交換を行うことができる。
【０３４０】
　なお、内視鏡リプロセッサ１は、エアフィルタ１５１の交換日時の管理に限定されるこ
となく、給水フィルタ１２７及びガスフィルタの交換日時も管理することができる。
【０３４１】
　（患者情報の入力）
　内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス工程を行う際に、患者情報をリプロセス工程の履
歴に紐付ける。従来の内視鏡リプロセッサ１は、患者情報をリプロセス工程の履歴に紐付
ける際に、患者名及び患者ＩＤ等の患者情報の入力を手入力で行っていた。
【０３４２】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１は、装置本体１１１に配置されているバーコードリーダ
２により患者情報が記録されたバーコードを読み込む構成となっている。ユーザは、バー
コードリーダ２に患者情報が記録されたバーコードをかざして、内視鏡リプロセッサ１に
患者情報を読み込ませる。このとき、内視鏡リプロセッサ１は、患者情報を操作パネル２
１１に表示するとともに、患者情報をリプロセス工程の履歴に紐付ける。
【０３４３】
　この結果、内視鏡リプロセッサ１は、バーコードリーダ２に患者情報が記録されたバー
コードをかざして、患者情報を読み込ませることで、患者情報の入力を簡便にし、ユーザ
ビリティを向上させることができる。
【０３４４】
　（薬液濃度と工程履歴との紐付け）
　薬効確認のための薬液の濃度をユーザが測定または判定している。薬液の濃度の測定ま
たは判定は、例えば、デジタル濃度計により薬液の濃度（％）を測定する、あるいは、テ
ストストリップと呼ばれる簡易試験紙を薬液に浸し、簡易試験紙の変色により薬液の濃度
がＯＫかＮＧかを判定している。
【０３４５】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、操作パネル２１１に表示されるリプロセス工程の履
歴の画面に濃度入力ボタンを配設する。ユーザは濃度入力ボタンを押下し、例えばデジタ
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ル濃度計により測定された薬液の濃度（％）を入力する。これにより、内視鏡リプロセッ
サ１は、リプロセス工程の履歴に測定された薬液の濃度（％）を紐付けることができる。
【０３４６】
　また、内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス工程の履歴に測定された薬液の濃度を紐付
けた際に、紐付けてからリプロセス工程の実行の前後で所定の時間が過ぎた場合、警告画
面を操作パネル２１１に表示する。例えば、薬液の濃度を測定してから所定の時間が過ぎ
ている場合、薬液の濃度が変わって可能性があるため、内視鏡リプロセッサ１は、ユーザ
にもう一度、薬液の濃度を測定するように促す警告画面を操作パネル２１１に表示する。
【０３４７】
　さらに、内視鏡リプロセッサ１は、リプロセス工程の履歴に測定された薬液の濃度（％
）を紐付けた際に、薬液の濃度（％）が低い場合、警告画面を操作パネル２１１に表示し
、リプロセス工程の開始を止めることができる。
【０３４８】
　（連続通電後の再起動）
　上述したように、内視鏡リプロセッサ１では、例えば、朝の業務開始直後等、即座に最
適な温度の薬液を使用することができるように、夜間のうちに加温部８３によって薬液を
加温する。
【０３４９】
　この場合、内視鏡リプロセッサ１は、ユーザによって加温タイマーがセットされ、夜間
のうちに薬液を加温する夜間運転を行う。システム障害は内視鏡リプロセッサ１を再起動
することにより解消する。
【０３５０】
　そこで、内視鏡リプロセッサ１は、夜間運転等で連続通電した際に、一定期間が経過す
ると、再起動を促すための待機画面を操作パネル２１１に表示する。ユーザは操作パネル
２１１に表示された待機画面において再起動を行うためのボタンを押下することにより、
内視鏡リプロセッサ１の再起動を実行する。
【０３５１】
　この結果、内視鏡リプロセッサ１は、ソフトウェアの連続稼働によるシステム障害を防
ぐことができる。なお、内視鏡リプロセッサ１は、連続通電した後、一定期間後に自動的
に再起動を行うようにしてもよい。
【０３５２】
　（加温タイマー後の攪拌）
　内視鏡リプロセッサ１は、加温タイマーにより夜間のうちに加温部８３によって薬液を
加温する。
【０３５３】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、加温タイマー後に薬液タンク８１内の薬液を攪拌さ
せるための表示画面を操作パネル２１１に表示する。ユーザは、朝の業務開始直後等に操
作パネル２１１に表示された表示画面を操作し、薬液タンク８１内の薬液の攪拌を内視鏡
リプロセッサ１に指示する。この結果、内視鏡リプロセッサ１は、薬液ノズル６３内の薬
液の濃度と、薬液タンク８１内の薬液の濃度とを均一にすることができる。
【０３５４】
　加温タイマー後の攪拌は、薬液ノズル６３内の薬液の濃度と、薬液タンク８１内の薬液
の濃度とを均一にする効果に加え、薬液タンク８１内の薬液の温度を安定させる効果を有
する。
【０３５５】
　（超音波出力のばらつきの抑制）
　図２９に示すように、処理槽２１の底面の下部には、例えば２つの振動部１６０が配設
されている。振動子１６０は、処理槽２１に貯留される洗浄水、あるいは水道水に超音波
振動を与えて、内視鏡Ｅの外表面を超音波洗浄、あるいは濯ぐものである。
【０３５６】
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　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、振動子１６０に流れる電流を検出し、検出した電流
値をフィードバックして超音波出力の調整を行うようにしている。
【０３５７】
　図３８は、本考案の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの超音波出力に関わる構成
を説明するための図である。
【０３５８】
　図３８に示すように、内視鏡リプロセッサ１は、振動子１６０及び制御部１６３に加え
、超音波出力の制御を行う超音波基板３３０と、超音波基板３３０の制御に応じて振動子
１６０に超音波駆動信号を出力する超音波駆動部３３１とを有して構成されている。
【０３５９】
　振動子１６０に流れる電流は、図示しない電流センサにより検出され、検出された電流
値が超音波基板３３０に入力される。そして、超音波基板３３０は、入力された電流値を
制御部１６３にフィードバックする。制御部１６３は、フィードバックされた電流値を所
定の設定値と比較し、比較結果に応じた制御信号を超音波基板３３０に出力する。超音波
基板３３０は、制御部１６３からの制御信号に基づき、超音波出力を制御する。
【０３６０】
　この結果、内視鏡リプロセッサ１は、超音波洗浄を行う際、洗浄物等の負荷変動による
超音波出力のばらつきを抑えることができる。
【０３６１】
　（濯ぎ工程による流量判定）
　内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡ＥのチューブＴが接続されているか、内視鏡Ｅ内の
管路が詰まっていないかを検出するフローコントロールを実施する。このフローコントロ
ールは、送流体管路１７１に流れる流体の流量を流量センサ１７３により測定する。
【０３６２】
　流量センサ１７３が電磁流量計である場合、送流体管路１７１に流れる流体の流量を測
定する際は、流体の導電率が一定以上必要となる。
【０３６３】
　本考案の内視鏡リプロセッサ１は、消毒工程直後の１回目の濯ぎ工程において、送流体
管路１７１に流れる流体の流量を測定するようにしている。１回目の濯ぎ工程であれば、
消毒工程で使用した薬液の残液により、ある一定以上の導電率を確保することが可能とな
り、流量センサ１７３として電磁流量計を使用している場合でも、送流体管路１７１に流
れる流体の流量の測定を行うことができる。
【０３６４】
　本考案は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本考案の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０３６５】
１　　 内視鏡リプロセッサ
２　　 バーコードリーダ
３　　 スタイラスホルダ
４　　 スタイラスペン
５　　 取付孔
１１　 トップカバー
１１ａ ドーム
１２　 パッキン
１２ａ リップ
１２ｂ 肉厚部
１３　 ガスフィルタ取付口
１４、１５　　リブ
２１　 処理槽



(35) JP 3205321 U 2016.7.21

10

20

30

40

50

２１ａ 底部
２２　 底部凹部
２２ａ 第１の操作部配置部
２２ｂ 第２の操作部配置部
２２ｃ 第１のスコープコネクタ配置部
２２ｄ 第２のスコープコネクタ配置部
２３　 処理槽壁
２４　 処理槽上縁
２５　 パッキン受け
３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８　　送気送水用コネクタ
４１　 保持網
４２　 洗浄ケース取付部
５１　 洗浄ケース
５１ａ 貫通溝
５１ｂ 位置決め部
６１、６２　　水位計
６１ａ、６２ａ　　　 円筒容器
６１ｂ、６２ｂ　　　 ステム
６１ｃ１、６１ｃ２、６２ｃ　ストッパ
６１ｄ１、６１ｄ２、６２ｄ　フロート
６３　 薬液ノズル
６３ａ 胴部
６３ｂ キャップ
６３ｃ 逆止弁
６３ｄ 薬液導出口
６３ｅ 薬液受け止め部
６３ｆ 複数の矩形孔
６３ｇ 貫通孔
６３ｈ ストッパ
７１　 循環ノズル
７１ａ 吐出しノズル
８１　 薬液タンク
８１ａ 加温部取付口
８１ｂ 開口
８１ｃ 突出部
８２　 ドレン部
８３　 加温部
８３ａ 支持部
８３ｂ 発熱部
８３ｃ サーモスタット
８３ｄ フランジ
８４　 水位センサ
８５　 温度センサ
８６ａ 第１の過加温検出部
８６ｂ 第２の過加温検出部
８６ｃ パワーリレー
８６ｄ ソリッドステートリレー
８７　 水位センサ
８７ａ 検出電極
８７ｂ 接地電極
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９１　 薬液ボトル
９２　 洗剤タンクトレイ
９３　 チューブ接続部
９４ａ、９４ｂ　　　 インナートレイ
１０１、１０１Ａ　　 管路部材
１０１ａ、１０１ｂ　 接続部
１０２ 通気チューブ
１０２Ａ、３００　　 自動漏水検知装置
１０３ 排水チューブ
１０３Ａ　　　開閉弁
１０３Ｂ　　　水受け部
１０３Ｃ　　　電極
１１１ 装置本体
１２１ 水道栓
１２２ 給水ホース接続口
１２２ａ　　　チューブ
１２３ 給水管路
１２４ 三方電磁弁
１２５ 給水電磁弁
１２６ 逆止弁
１２７ 給水フィルタ
１２８ 流液管路
１２９ 非自吸式のポンプ
１３０ 循環口
１３１ 循環管路
１３２ チャンネル管路
１３３、１３３Ａ、１３３Ｂ　漏水検知用コネクタ
１３４ 第２ノズル
１３５ チャンネルポンプ
１３６ チャンネルブロック
１３７ チャンネル電磁弁
１３８ 開閉弁
１３９ ケース用管路
１４０、１８８　　　 リリーフ弁
１４１ 洗剤ノズル
１４２ 洗浄剤管路
１４３ａ　　　洗剤タンク
１４３ｂ　　　アルコールタンク
１４４ 洗剤用ポンプ
１４５ アルコール管路
１４６ アルコール供給ポンプ
１４７ 電磁弁
１４８ 送気ポンプ
１４９ エア管路
１５０ 逆止弁
１５１ エアフィルタ
１５２ 排出口
１５３ 排液管路
１５４ 排水ポンプ
１５５ 薬液回収管路
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１５６ 薬液供給管路
１５７ 吸引フィルタ
１５８ 薬液管路
１５９ 薬液移送部
１６０ 振動部
１６１ ヒータ
１６１ａ　　　温度検知センサ
１６２ 電源
１６３ 制御部
１７１ 送流体管路
１７１Ａ　　　バイパス路
１７２、１７４、１７５　　　ＣＨブロック
１７３、１７３ａ　　 流量センサ
１７６ 液体供給管路
１７７ チャンネルポンプ
１７８、１８７　　　 大気開放管路
１７９ 切替弁
１８０ 排水管路
１８１、１８２、１８６、１８６Ａ、Ｖ　　　弁
１８３ 排水ポンプ
１８４ 消毒液管路
１８５ 循環管路
２１１ 操作パネル
３１１ エアポンプ
３１２、３１３、３１４、３２０　　 配管
３１５ フィルタ
３１６、３１７、３２１　　　締切弁
３１８、３１９、３２２　　　圧力センサ
３２３ 大気圧センサ
３３０ 超音波基板
３３１ 超音波駆動部
Ｃ１　 チェーン
Ｃ２　 タグ
Ｅ、Ｅ１、Ｅ２　　　 内視鏡
Ｅａ、Ｅ１ａ、Ｅ２ａ 操作部
Ｅｂ、Ｅ１ｂ、Ｅ２ｂ スコープコネクタ
Ｈ　　 部位
Ｉ　　 内周方向
ＰＰ　 所定期間
ＰＴ、Ｓｔ　　所定時間
Ｒ　　 リーク量
Ｔ、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４　接続チューブ
Ｔｃ　 内視鏡側コネクタ
Ｔｄ　 チューブ取付筒
ｔ０、ｔ１、ｔ２、ｔ３　　　時刻
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